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 تِ ًام خذا

 اػتاًذاسد اٗشاى ٖهلآؿٌاٖٗ تا ػاصهاى 

لبٖ٘ٛ انلاح لٛا٥٘ٗ ٚ ٔمطضار ٔؤؾؿ١ اؾشب٘ساضز ٚ سحم٥مبر نٙٗش٣ ا٤رطاٖ، ٔهرٛة     3ؾبظٔبٖ ٣ّٔ اؾشب٘ساضز ا٤طاٖ ثٝ ٔٛخت ثٙس ٤ه ٔبز٠ 

 .٣ٕ وكٛض اؾز وٝ ٥ْٚف١ س٥٥ٗٗ، سس٤ٚٗ ٚ ٘كط اؾشب٘ساضزٞب٢ ٣ّٔ )ضؾ٣ٕ( ا٤طاٖ ضا ثٝ ٖٟسٜ زاضزسٟٙب ٔطخٕ ضؾ1371ثٟٕٗ ٔبٜ

ٖ    ٞب ٥ٖٛٞب٢ ٔرشّف زض و٥ٕؿسس٤ٚٗ اؾشب٘ساضز زض حٛظٜ ٘ٓرطاٖ ٔطاورع ٚ ٔؤؾؿربر ّٖٕر٣،     نربحت  ،٢ فٙر٣ ٔطورت اظ وبضقٙبؾربٖ ؾربظٔب

ٍٕٞبْ ثب ٔهبِح ٣ّٔ ٚ ثب سٛخٝ ثٝ قطا٤ٍ س٥ِٛرس٢، فٙربٚض٢ ٚ سدربض٢     قٛز ٚ وٛقك٣دػٚٞك٣، س٥ِٛس٢ ٚ الشهبز٢ آٌبٜ ٚ ٔطسجٍ ا٘دبْ ٣ٔ

وٙٙرسٌبٖ، ٔطاورع   وٙٙسٌبٖ، نربزضوٙٙسٌبٖ ٚ ٚاضز نبحجبٖ حك ٚ ٘فٕ، قبُٔ س٥ِٛسوٙٙسٌبٖ، ٔهطف ١اؾز وٝ اظ ٔكبضوز آٌبٞب٘ٝ ٚ ٔٙهفب٘

٣ّٔ ا٤طاٖ ثطا٢ ٘ٓطذٛا٣ٞ ثرٝ ٔطاخرٕ    اؾشب٘ساضزٞب٤ٛ٘٢ؽ  قٛز. د٥فزِٚش٣ حبنُ ٣ٔٞب٢ زِٚش٣ ٚ غ٥ط٣ّٕٖ ٚ سرهه٣، ٟ٘بزٞب، ؾبظٔبٖ

٣ّٔ ٔطسجٍ ثرب آٖ ضقرشٝ َرطح ٚ زض    ١ قٛز ٚ دؽ اظ زض٤بفز ٘ٓطٞب ٚ د٥كٟٙبزٞب زض و٥ٕش ٢ ٔطثٌٛ اضؾبَ ٣ٔٞب ٥ٖٛو٥ٕؿ ٘فٕ ٚ اًٖب٢ش٢

 قٛز.ثٝ ٖٙٛاٖ اؾشب٘ساضز ٣ّٔ )ضؾ٣ٕ( ا٤طاٖ چبح ٚ ٔٙشكط ٣ٔ ،نٛضر سه٤ٛت

ّٔر٣   ١وٙٙس زضو٥ٕشر  ٥٘ع ثب ضٖب٤ز يٛاثٍ س٥٥ٗٗ قسٜ س٥ٟٝ ٣ٔ نلاحش٢ٔٙس ٚ  ٞب٢ ٖلالٝ وٝ ٔؤؾؿبر ٚ ؾبظٔبٖ  ٤ٛ٘ؽ اؾشب٘ساضزٞب٣٤ د٥ف

قٛز وٝ ثرط  ٣ّٔ سّم٣ ٣ٔ قٛز. ثس٤ٗ سطس٥ت، اؾشب٘ساضزٞب٣٤ ثطضؾ٣ ٚ زضنٛضر سه٤ٛت، ثٝ ٖٙٛاٖ اؾشب٘ساضز٣ّٔ ا٤طا٘چبح ٚ ٔٙشكط ٣ٔ ،َطح

 قرٛز  سكى٥ُ ٣ٔا٤طاٖ اؾشب٘ساضز  زض ؾبظٔبٖ ٣ّٔ٣ّٔ اؾشب٘ساضز ٔطثٌٛ وٝ ١ سس٤ٚٗ ٚ زض و٥ٕش 5 ٠ضاؾشب٘ساضز ٣ّٔ ا٤طاٖ قٕب ٔمطضار اؾبؼ 

 ثٝ سه٤ٛت ضؾ٥سٜ ثبقس.

(ISO)ا٣ِّّٕ اؾشب٘ساضز ا٤طاٖ اظ اًٖب٢ ان٣ّ ؾبظٔبٖ ث٥ٗز ؾبظٔبٖ ٣ّٔ اؾشب٘ساض
1 ٗ ٚ ؾربظٔبٖ   2(IECإِّّر٣ اِىشطٚسى٥ٙره)   ،و٥ٕؿ٥ٖٛ ثر٥

(OIML)٣٘ٛقٙبؾ٣ لب٘ ا٣ِّّٕ ا٘ساظٜ ث٥ٗ
(CAC)و٥ٕؿ٥ٖٛ وسوؽ غصا٣٤ 4اؾز ٚ ثٝ ٖٙٛاٖ سٟٙب ضاثٍ 3

وٙرس. زض   زض وكرٛض فٗب٥ِرز ٔر٣    5

ٞب٢ ٣ّٕٖ، ف٣ٙ ٚ نٙٗش٣ خٟبٖ  ٞب٢ ذبل وكٛض، اظ آذط٤ٗ د٥كطفز سس٤ٚٗ اؾشب٘ساضزٞب٣ّٕ٤ ا٤طاٖ يٕٗ سرٛخٝ ثٝ قطا٤ٍ و٣ّ ٚ ٥٘بظٔٙس٢

 قٛز. ٥ٌط٢ ٣ٔ ا٣ِّّٕ ثٟطٜ ٚ اؾشب٘ساضزٞب٢ ث٥ٗ

وٙٙرسٌبٖ، حفرّ ؾرلأز ٚ ا٤ٕٙر٣      ث٣ٙ٥ قسٜ زض لبٖ٘ٛ، ثطا٢ حٕب٤ز اظ ٔهطف سٛا٘س ثب ضٖب٤ز ٔٛاظ٤ٗ د٥ف ؾبظٔبٖ ٣ّٔ اؾشب٘ساضز ا٤طاٖ ٣ٔ

ٔح٣ُ٥ ٚ الشهبز٢، اخطا٢ ث٣ًٗ اظ اؾشب٘ساضزٞب٢ ّٔر٣ ا٤رطاٖ ضا    فطز٢ ٚ ٣ٕٖٔٛ، حهَٛ ا٥َٕٙبٖ اظ و٥ف٥ز ٔحهٛلار ٚ ٔلاحٓبر ظ٤ؿز

سٛا٘س ثرٝ ٔٙٓرٛض حفرّ    . ؾبظٔبٖ ٣ٔوٙس زاذُ وكٛض ٚ/٤ب اللاْ ٚاضزاس٣، ثب سه٤ٛت قٛضا٢ ٖب٣ِ اؾشب٘ساضز، اخجبض٢ ثطا٢ ٔحهٛلار س٥ِٛس٢

. ٕٞچٙر٥ٗ ثرطا٢ ا٥َٕٙربٖ    وٙرس  ثٙس٢ آٖ ضا اخجبض٢ ا٣ِّّٕ ثطا٢ ٔحهٛلار وكٛض، اخطا٢ اؾشب٘ساضز وبلاٞب٢ نبزضاس٣ ٚ زضخٝ ثبظاضٞب٢ ث٥ٗ

 ٞب٢ؾ٥ؿشٓ ٔكبٚضٜ، آٔٛظـ، ثبظضؾ٣، ٥ٕٔع٢ ٚ نسٚضٌٛا٣ٞ ١ٞب ٚ ٔؤؾؿبر فٗبَ زض ظ٥ٔٙ بر ؾبظٔبٖوٙٙسٌبٖ اظ ذسٔ ثٝ اؾشفبزٜ ثرك٥سٖ

ٗ   ؾبظٔبٖ ٣ّٔٚؾب٤ُ ؾٙدف،  وب٥ِجطاؾ٥ٖٛ )ٚاؾٙد٣(ٞب ٚ ٔطاوع  ٔح٣ُ٥، آظٔب٤كٍبٜ ٔس٤ط٤ز و٥ف٥ز ٚ ٔس٤ط٤ز ظ٤ؿز ٌٛ٘رٝ   اؾرشب٘ساضز ا٤ر

وٙرس ٚ زض نرٛضر احرطاظ قرطا٤ٍ لاظْ، ٌٛا٥ٞٙبٔر١ سأ٥٤رس        ٥ز ا٤طاٖ اضظ٤ربث٣ ٔر٣  ٞب ٚ ٔؤؾؿبر ضا ثط اؾبؼ يٛاثٍ ٘ٓبْ سأ٥٤س نلاح ؾبظٔبٖ

ٚؾب٤ُ ؾٙدف، س٥٥ٗٗ ٥ٖربض فّرعار   وب٥ِجطاؾ٥ٖٛ ٤ىبٞب،  ا٣ِّّٕ ٞب ٘ٓبضر ٥ٔىٙس. سط٤ٚح زؾشٍبٜ ث٥ٗٞب اُٖب ٚ ثط ّٖٕىطز آٖنلاح٥ز ثٝ آٖ

 .اؾز ؾبظٔبٖا٤طاٖ اظ ز٤ٍط ْٚب٤ف ا٤ٗ  ٣ّٔ ٌطا٘جٟب ٚ ا٘دبْ سحم٥مبر وبضثطز٢ ثطا٢ اضسمب٢ ؾُح اؾشب٘ساضزٞب٢

 

                                                 

1- International Organization for Standardization 

2- International Electrotechnical Commission 

3- International Organization for Legal Metrology (Organisation Internationale de Metrologie Legals) 

4- Contact point 

5- Codex Alimentarius Commission  
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 وو٘ؼَ٘ى فٌٖ تذٍٗي اػتاًذاسد

 «ًاهٍٔاطُ -ؿٌاػٖ دس هم٘اع ًاًَاًذاصُ–فٌاٍسٕ ًاًَ»

 ػوت ٍ/ٗا هحل اؿتغال: سئ٘غ:

 ٥ٔطوب٣ْٕ، ؾ٥س ٔحٕس

 )زوشطا٢ ٟٔٙسؾ٣ ٔٛاز(

 ًٖٛ ٥ٞئز ٣ّٕٖ، زا٘كٍبٜ ّٖٓ ٚ نٙٗز ا٤طاٖ

  دت٘ش:

 ؾٟطاث٣ خٟط٣ٔ، اثٛشض

 )زوشطا٢ ٘ب٘ٛفٙبٚض٢(

 ٞب٢ د٥كطفشٝآٚض٢ ٔس٤ط ٖبُٔ، قطوز ضانس سٛؾٗٝ فٗ

 ػوت ٍ/ٗا هحل اؿتغال: )اػاهٖ تِ تشت٘ة حشٍف الفثا(اػضا:

 اِٝ آٌٙس، ضٚح

 )وبضقٙبؾ٣ اضقس ٟٔٙسؾ٣ ٔٛاز(

 ٞب٢ د٥كطفشٝآٚض٢ وبضقٙبؼ اؾشب٘ساضز، قطوز ضانس سٛؾٗٝ فٗ

 اؾلا٣ٔ دٛض، اِٟٝ

 (ظ٤ؿز قٙبؾ٣ اضقس ٣)وبضقٙبؾ

 وبضقٙبؼ، و٥ٕشٝ اؾشب٘ساضزؾبظ٢ ؾشبز ٤ٚػٜ سٛؾٗٝ فٙبٚض٢ ٘ب٘ٛ

 حؿٗ ٢،دٛ ٢دٛ

 )وبضقٙبؾ٣ اضقس ق٣ٕ٥(

 ٘ب٘ٛ ٢سٛؾٗٝ فٙبٚض ٤ػٜؾشبز ٚ ٢اؾشب٘ساضزؾبظ ٥شٝوٕ ٥طزث

 ٕ٘ب٤ٙسٜ فطٍٞٙؿشبٖ ظثبٖ ٚ ازة فبضؾ٣ ْط٤ف، ٔحٕٛز

  (قٙبؾ٣ )زا٘كد٢ٛ زوشط٢ ظثبٖ

 وبضقٙبؼ، و٥ٕشٝ اؾشب٘ساضزؾبظ٢، ؾشبز ٤ٚػٜ سٛؾٗٝ فٙبٚض٢ ٘ب٘ٛ ظضز٢، ؾ٥ٕطا ٌُ

  )وبضقٙبؾ٣ اضقس، ٟٔٙسؾ٣ ٔٛاز(

 ٔٗبٚ٘ز ٔطوع ٣ّٔ ا٘ساظٜ قٙبؾ٣ ٔحٕس٢ ٥ِٛاض٢، احس

  )وبضقٙبؾ٣ اضقس ف٥ع٤ه(

 ٥ٔطوب٣ْٕ، ؾ٥س ٔحٕس

 )زوشطا٢ ٟٔٙسؾ٣ ٔٛاز( 

 ًٖٛ ٥ٞئز ٣ّٕٖ، زا٘كٍبٜ ّٖٓ ٚ نٙٗز ا٤طاٖ

 

 ٍٗشاػتاس:

 ٛضثرف، ض٤ٚب٘

 ؾٓ قٙبؾ٣( وبضقٙبؾ٣ اضقس)

 

  ٖ دػٚٞكرٍبٜ اؾرشب٘ساضز دػٚٞكرىسٜ     -ؾبظٔبٖ ٣ّٔ اؾرشب٘ساضز ا٤رطا

 غصا٣٤ ٚ وكبٚضظ٢
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 هٌذسجات فْشػت

 صفحِ ػٌَاى

 ٜ ٌفشبض ف٥د

 2 ٞسف ٚ زا١ٙٔ وبضثطز 1

 2 ٔطاخٕ اِعا٣ٔ 2

 3 ف٤سٗبض ٚ انُلاحبر 3

 3 فٙبٚض٢ ٘ب٘ٛ ثب ٔطسجٍ ٣ٖٕٛٔ ٚاغٌبٖ 3-1 

 8 ٢ط٥ٌا٘ساظٜ ثٝ ٔطثٌٛ ٚاغٌبٖ 3-2 

 18 ٤بث٣ ٘ب٘ٛٔٛازٞب٢ ٔكرهٝٞب ٚ زؾشٍبٜٚاغٌبٖ ٔطثٌٛ ثٝ ٔفب٥ٞٓ، ضٚـ 3-3 

 18 ٘ٛضد٤ٛب دطاوٙس٣ٌٚاغٌبٖ ٔطثٌٛ ثٝ ضٚـ  -3-3-1  

 19 دطاـ دطسٛ ا٤ىؽٚاغٌبٖ ٔطثٌٛ ثٝ ضٚـ  -3-3-2  

 21 ٥ٔىطٚؾىٛد٣ اِىشط٣٘ٚ ضٚثك٣  ٚاغٌبٖ ٔطثٌٛ ثٝ ضٚـ -3-3-3  

 26  ٚاغٌبٖ ٔطثٌٛ ثٝ ضٚـ ٥ٔىطٚؾىٛد٣ اِىشط٣٘ٚ ٖجٛض٢ -3-3-4  

 32  ٚاغٌبٖ ٔطثٌٛ ثٝ ضٚـ ٥ٔىطٚؾىٛد٣ ٥٘ط٢ٚ اس٣ٕ -3-3-5  

 33 ٤بث٣ كرهٝٞب٢ ٔؾب٤ط ضٚـ ٚاغٌبٖ ٔطثٌٛ ثٝ ضٚـ -3-3-6  
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 گفتاس پ٘ؾ

زض ٞب٢ ٔطثٌٛ ٤ٛ٘ؽ آٖ زض و٥ٕؿ٥ٖٛ وٝ د٥ف« ٘بٔٝٚاغٜ -قٙبؾ٣ زض ٔم٥بؼ ٘ب٘ٛا٘ساظٜ-فٙبٚض٢ ٘ب٘ٛ»اؾشب٘ساضز 

فٙربٚض٢  اخلاؾ٥ٝ و٥ٕش١ ٣ّٔ اؾرشب٘ساضز   ؾ٣ ٚ قك٥ٕٗؾبظٔبٖ ٣ّٔ اؾشب٘ساضز ا٤طاٖ س٥ٟٝ ٚ سس٤ٚٗ قسٜ ٚ زض 

لربٖ٘ٛ انرلاح لرٛا٥٘ٗ ٚ     3ا٤ٙه ا٤ٗ اؾشب٘ساضز ثٝ اؾشٙبز ثٙس ٤ه ٔربز٠  . سه٤ٛت قس 28/10/1395ٔٛضخ  ٘ب٘ٛ

، ثٝ ٖٙٛاٖ اؾشب٘ساضز ّٔر٣ ا٤رطاٖ   1371ٚ سحم٥مبر نٙٗش٣ ا٤طاٖ، ٔهٛة ثٟٕٗ ٔبٜ  اؾشب٘ساضزٔمطضار ٔؤؾؿٝ 

 قٛز. ٔٙشكط ٣ٔ

ٖ  5اؾشب٘ساضزٞب٢ ٣ّٔ ا٤طاٖ ثط اؾبؼ اؾشب٘ساضز ٣ّٔ ا٤طاٖ قٕبض٠  ؾربذشبض ٚ قر٠ٛ٥    -)اؾشب٘ساضزٞب٢ ٣ّٔ ا٤رطا

ٞب٢ ٣ّٔ ٚ خٟرب٣٘ زض ظ٥ٔٙرٝ    قٛ٘س. ثطا٢ حفّ ٍٕٞب٣ٔ ٚ ٕٞب٣ٍٙٞ ثب سحٛلار ٚ د٥كطفزٍ٘بضـ( سس٤ٚٗ ٣ٔ

ّعْٚ سدس٤س٘ٓط ذٛاٞٙس قرس ٚ ٞرط د٥كرٟٙبز٢ ورٝ     نٛضسزض نٙب٤ٕ، ّْٖٛ ٚ ذسٔبر، اؾشب٘ساضزٞب٢ ٣ّٔ ا٤طاٖ 

ٞب اضائٝ قٛز، زض ٍٞٙبْ سدس٤س٘ٓط زضو٥ٕؿ٥ٖٛ ف٣ٙ ٔطثٌٛ، ٔرٛضز سٛخرٝ   ثطا٢ انلاح ٤ب سى٥ُٕ ا٤ٗ اؾشب٘ساضز

 ثٙبثطا٤ٗ، ثب٤س ٕٞٛاضٜ اظ آذط٤ٗ سدس٤س٘ٓط اؾشب٘ساضزٞب٢ ٣ّٔ ا٤طاٖ اؾشفبزٜ وطز.لطاض ذٛاٞس ٌطفز. 

 ٔٙجٕ ٚ ٔبذص٢ وٝ ثطا٢ س٥ٟٝ ٚ سس٤ٚٗ ا٤ٗ اؾشب٘ساضز ٔٛضز اؾشفبزٜ لطاض ٌطفشٝ ثٝ قطح ظ٤ط اؾز:

: 4723اؾشب٘ساضز ٣ّٔ ا٤طاٖ، قرٕبضٜ   ،قٙبؾ٣، ٔفب٥ٞٓ و٣ّ ٚ دب٤ٝ ٚ انُلاحبر ٔطسجٍ ثب آٖساظٜا٘ ١٘بٔٚاغٜ

  .1390ؾبَ 

ISO-TS 80004-6: 2013, Nanotechnologies - Vocabulary - Part 6: Nano-object 

characterization. 
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 دس هم٘اع ًاًَ ؿٌاػٖاًذاصُ ًٔاهٍاطُ

 داهٌٔ واستشدّذف ٍ  1

ٛ  سٗط٤ف ٚ انُلاحبر ٔطسجٍ ثب ا٘ساظٜاضائٝ  ،ٞسف اظ سس٤ٚٗ ا٤ٗ اؾشب٘ساضز ا٤رٗ  اؾرز.   1قٙبؾ٣ زض ٔم٥ربؼ ٘رب٘

إِّّر٣ اضخرب٣ٖ،   اؾشب٘ساضزٞب٢ ث٥ٗ اؾشب٘ساضز ٖلاٜٚ ثط اضائٝ ٔٗب٣٘ ٚ ٔفب٥ٞٓ ثهٛضر زل٥ك ٚ ُٔٙجك ثب ؾبذشبض

وٛق٥سٜ اؾز سب خبٕٔ اؾشب٘ساضزٞب٣٤ ثبقس وٝ اظ ِحبِ ٘ب٘ٛ ثٛزٖ ؾربذشبض ٔرٛاز ٔرٛضز اؾرشفبزٜ زض آٟ٘رب ٚ ٤رب       

 ٞؿشٙس. ٥ٌط٢ا٘ساظٜثٝ ٘ح٢ٛ ٔطسجٍ ثب  ٤ب اثعاض٢ وٝ زض آٟ٘ب اؾشفبزٜ قسٜ اؾز،ٞب ضٚـ

 ٥ٌط٢ زض ٔم٥بؼ ٘ب٘ٛ وبضثطز زاضز.ا٘ساظٜٞب ٚ سد٥ٟعار بٜٞب، اثعاضٞب، زؾشٍضٚـ ١ا٤ٗ اؾشب٘ساضز ثطا٢ و٥ّ

 هشاجغ الضاهٖ 2

  .1388: ؾبَ 12098اؾشب٘ساضز ٣ّٔ ا٤طاٖ، قٕبضٜ  ،ٞب، انُلاحبر ٚ سٗبض٤ف ان٣ّفٙبٚض٢ ٘ب٘ٛ، ٚاغٜ 2-5

( ٚ SEMخساضٜ ثب اؾشفبزٜ اظ ٥ٔىطٚؾىٛح اِىشط٣٘ٚ ضٚثكر٣ ) ٞب٢ وطث٣ٙ سهس٥٥ٗٗ ٔكرهبر ٘بِِ٘ٛٛٝ 2-2

: 14095اؾشب٘ساضز ٣ّٔ ا٤رطاٖ، قرٕبضٜ   (، EDXثط اؾبؼ سٛظ٤ٕ ا٘طغ٢ ) دطسٛ ا٤ىؽؾٙد٣ ٥َفسح٥ُّ 

  .1390ؾبَ 

2-3 ISO 29301:2010, Microbeam analysis -- Analytical transmission electron microscopy -- 

Methods for calibrating image magnification by using reference materials having 

periodic structures. 

2-4 ISO 13321:1996, Particle size analysis -- Photon correlation spectroscopy. 

2-5 ISO 25498: 2010:2010, Microbeam analysis -- Analytical electron microscopy -- 

Selected-area electron diffraction analysis using a transmission electron microscope. 

2-6 ISO GUIDE 99: 2007, International vocabulary of metrology -- Basic and general 

concepts and associated terms (VIM). 

2-7 ASTM F1877 – 10, Standard Practice for Characterization of Particles. 
2-8 ASTM E 1426-14, Standard Test Method for Determining the X-Ray Elastic Constants 

for Use in the Measurement of Residual Stress Using X-Ray Diffraction Techniques. 

2-9 ASTM E986 – 10, Standard Practice for Scanning Electron Microscope Beam Size 

Characterization. 

2-10 BSI-PAS 136: 2007, Terminology for nanomaterials. 
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 تؼاسٗف اصغلاحات ٍ 9

انُلاحبر ٚ  12098ٚ  4723انُلاحبر ٚ سٗبض٤ف اضا٤ٝ قسٜ زض اؾشب٘ساضزٞب٢ ٣ّٔ قٕبضٜ  ،زض ا٤ٗ اؾشب٘ساضز

 سٗبض٤ف ظ٤ط ثٝ وبض ٣ٔ ضٚ٘س.

 فٌاٍسٕ ًاًٍَاطگاى ػوَهٖ هشتثظ تا    9-5

9-5-5 

 اًثَِّ

aggregate 

ٝ سٛا٘س ثآٖ ٣ٔ اظ ل٢ٛ وٝ ٔؿبحز ؾُح ذبضخ٣ حبنُ ٢ثب د٥ٛ٘سذٛضزٜ  اؾز قبُٔ شضار خٛـ ا٢ٔدٕٖٛٝ

 سط ثبقس.وٛچه سه اخعاءثطا٢ سه ؾُٛح ٤ٚػَٜٛض چك٥ٍٕط٢ اظ ٔدٕٛٔ 

-، ٥٘طٚٞب٢ ٘بق٣ اظ سرف 1و٣أب٘ٙس د٥ٛ٘سٞب٢ اقشط ل٢ٛ ، ٥٘طٚٞب٣٤زاضز٥٘طٚٞب٣٤ وٝ ٤ه ا٘جٛٞٝ ضا ٤ىذبضچٝ ٍ٘ٝ ٣ٔ -1 ٗادآٍسٕ

 .ٞؿشٙس سٜذٛضز٣ٌ ف٥ع٤ى٣ د٥چ٥ٌطٜ ٚ ٤بخٛق٣ 

 ٘بٔٙس.٥٘ع ٣ٔ "شضار ا٥ِٚٝ"ٚ شضار ان٣ّ ضا  "شضار ثب٤ٛ٘ٝ"ا٘جٛٞٝ ضا  -2 ٗادآٍسٕ

 [1388: ؾبَ 12098قٕبضٜ ، ٣ّٔ ا٤طاٖاؾشب٘ساضز  ]ٔٙجٕ: ثطٌطفشٝ قسٜ اظ

 

9-5-2 

 ُاًذاصُ رسّ

particle size 

 قٛز.٥ٌط٢ ٤ٚػٜ س٥٥ٗٗ ٣ٔسحز قطا٤ٍ ا٘ساظٜ ٚ ٥ٌط٢ ٔرهٛلشضٜ اؾز وٝ ثب ضٚـ ا٘ساظٜ اظ ٤ه ثٗس ٠ا٘ساظ

ا٘س. نطف ٘ٓرط اظ ذرٛال   ٥ٌط٢ ذٛال ف٥ع٤ى٣ ٔشفبٚر ثٙب ٟ٘بزٜ قسٜ، ثط دب٤ٝ ا٘ساظ٤ٜبث٣ٔكرهٝٞب٢ ٌٛ٘بٌٖٛ ضٚـ - ٗادآٍسٕ

 سٛاٖ ثٝ ٖٙٛاٖ ٤ه ثٗس ذ٣ُ ٚ ٔٗبزَ ثب لُط وط٢ٚ )شضٜ( زض ٘ٓط ٌطفز.ٚال٣ٗ شضٜ، ا٘ساظٜ شضٜ ضا ٣ٔ

 [ISO-TS 80004-6: 2013 ثطٌطفشٝ قسٜ اظ]ٔٙجٕ: 
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9-5-9 

 ؿٌاػٖ ؿٌاػٖ دس هم٘اع ًاًَ/ًاًَاًذاصُ اًذاصُ

nanometrology 

 ٘ب٘ٛ اؾز. قٙبؾ٣ زض ٔم٥بؼّٖٓ ا٘ساظٜ

 ٥ٌط٢ قٛ٘س.ا٘ساظٜ nm 100ٞب٢ ثعضٌشط اظ 1سٛا٘ٙس سٛؾٍ دطٚةذٛال ٘ب٘ٛٔم٥بؼ ٣ٔ - ٗادآٍسٕ

 

9-5-4 

 تؼل٘مِ )ػَػپاًؼَ٘ى(

suspension 

 ٔرٌّٛ ٘ب٣ٍٕٙٞ اظ ٔٛاز، قبُٔ ٤ه ٔب٤ٕ ٚ ٔبز٠ خبٔس٢ وٝ ثٝ ذٛث٣ زض آٖ دطاوٙسٜ قسٜ ثبقس.

 [ISO-TS 80004-6: 2013]ٔٙجٕ: ثطٌطفشٝ قسٜ اظ 

 

9-5-1 

 ؿىل رسُ

particle shape 

 ٞٙسؾ٣ ث٥ط٣٘ٚ ٤ه شضٜ اؾز. قىُ

 [ISO-TS 80004-6: 2013 ]ٔٙجٕ: ثطٌطفشٝ قسٜ اظ

 

9-5-6 

 ٖآئشٍدٌٗاه٘ىلغش 

aerodynamic diameter 

 زاضز.شضٜ ٌطا٘ك٣  ٘ك٣ٙ٥سٝؾطٖز  ٔٗبزَ ثبوٝ ؾطٖز ضؾٛة ٌطا٘ك٣  ،ثب چٍب٣ِ ٍٕٞٗ ا٢وطٜ لُط

 [BSI-PAS 136: 2007 ]ٔٙجٕ: ثطٌطفشٝ قسٜ اظ

 

 

                                                 

1- Probe 
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9-5-7 

 لغش تحشن

mobility diameter 

 .ززاض شضٜ سحطن ز٤ٙب٥ٔى٣ ٔٗبزَ ثبسحطن ز٤ٙب٥ٔى٣  ، وٝلُط ٤ه شضٜ وط٢ٚ

 [BSI-PAS 136: 2007 ]ٔٙجٕ: ثطٌطفشٝ قسٜ اظ

 

9-5-8 

 لغش فِشِت

feret diameter 

 شضٜ اؾز. ٤هٕٔبؼ ثط ٔطظ ٔٛاظ٢ ٚ ذٌُٛ  زٚ ٥بٖٔ ١فبنّ ٥ٔب٥ٍ٘ٗ

 [ASTM F1877 – 10 ]ٔٙجٕ: ثطٌطفشٝ قسٜ اظ

 

9-5-9 

 هؼادللغش 

equivalent diameter 

 شضٜ زاضز. ٘فٛش آًٞٙٔٗبزَ ثب  ٢وط٢ٚ وٝ ؾطٖز ٘فٛش ا٢شضٜ لُط

 [BSI-PAS 136: 2007 ]ٔٙجٕ: ثطٌطفشٝ قسٜ اظ

 

9-5-51 

 لغش ًفَر

diffusion diameter 

 ضا زاضز. ٘فٛش شضٜ آًٞٙوٝ ٕٞبٖ  لُط ٤ه وطٜ ثب چٍب٣ِ ٍٕٞٗ

 [BSI-PAS 136: 2007 ]ٔٙجٕ: ثطٌطفشٝ قسٜ اظ
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9-5-55 

 هلغش ّ٘ذسٍدٌٗاه٘

hydrodynamic diameter 

 ٔٛثط ٤ه شضٜ زض ٔح٥ٍ ٔب٤ٕ اؾز. لُط

 اؾز. Z ٖٕٛز٢ٔحٛض  لُط آٖ زض ضاؾشب٢ ٥ٔب٥ٍ٘ٗ ،1٘ٛضد٤ٛب دطاوٙس٣ٌ قسٜ سٛؾ٥ٌٍط٢لُط ٥ٞسضٚز٤ٙب٥ٔه ا٘ساظٜ - ٗادآٍسٕ

 [BSI-PAS 136: 2007 ]ٔٙجٕ: ثطٌطفشٝ قسٜ اظ 

 

9-5-52 

 ولَخِ

agglomerate 

ٞب٣٤ زٚسب٣٤ وٝ ٔؿبحز ؾرُح ذربضخ٣ ٔٙرشح آٖ    ٔرٌّٛٞب ٤ب ا٢ اظ شضار ثب اسهبَ ؾؿز ٤ب ا٘جٛٞٝٔدٕٖٛٝ

 ٞب٢ ؾُح سه سه اخعاء اؾز.ٔكبثٝ ٔدٕٛٔ ٔؿبحز

ذرٛضز٣ٌ  ا٘رس ٔب٘ٙرس ٚا٘رسضٚاِؽ ٚ ٥ُٕٞٙرٛض ٌرطٜ     زاض٘س، ٥٘طٚٞب٣٤ ير٥ٗف ٥٘طٚٞب٣٤ وٝ وّٛذٝ ضا ٤ىذبضچٝ ٍ٘ٝ ٣ٔ -1 ٗادآٍسٕ

 ف٥ع٤ى٣ ؾبزٜ.

 س.٘بٔٙٞب ضا شضار ثب٤ٛ٘ٝ ٥٘ع ٣ٔوّٛذٝ -2 ٗادآٍسٕ

 [1388: ؾبَ 12098اؾشب٘ساضز ٣ّٔ ا٤طاٖ، قٕبضٜ  ]ٔٙجٕ: ثطٌطفشٝ قسٜ اظ

 

9-5-59 

 هؼاحت ٍٗظٓ جشهٖ

mass specific surface area 

 ؾُح وُ ٕ٘ٛ٘ٝ سمؿ٥ٓ ثط خطْ آٖ اؾز.

kg/ ٤ىب٢ ؾُح ٤ٚػٜ خط٣ٔ،  - ٗادآٍسٕ
2

m .اؾز 

 [ISO-TS 80004-6: 2013]ٔٙجٕ: ثطٌطفشٝ قسٜ اظ 
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9-5-54 

 ٍٗظٓ حجوٖهؼاحت 

volume specific surface area 

 ؾُح وُ ٕ٘ٛ٘ٝ سمؿ٥ٓ ثط حدٓ آٖ اؾز.

 اؾز. m -٤1ىب٢ ؾُح ٤ٚػٜ حد٣ٕ،  - ٗادآٍسٕ

 [ISO-TS 80004-6: 2013]ٔٙجٕ: ثطٌطفشٝ قسٜ اظ 

 

9-5-51 

 ًاًَاهَلؼَ٘ى

nanoemulsion 

 نٛضر ض٤علُطٜ زض فبظ ٔب٤ٕ دطاوٙسٜ اؾز.ٝ أِٛؿ٥ٖٛ ٘ب٘ٛٔم٥بؼ وٝ ث

 [1388: ؾبَ 12098اؾشب٘ساضز ٣ّٔ ا٤طاٖ، قٕبضٜ  ]ٔٙجٕ: ثطٌطفشٝ قسٜ اظ

 

9-5-56 

 ؿٖءًاًَ

nano-object 

 ا٢ وٝ ٤ه، زٚ ٤ب ؾٝ ثٗس ذبضخ٣ آٖ ٘ب٘ٛٔم٥بؼ اؾز.ٔبزٜ

 ا٤ٗ انُلاح ٣ٕٖٔٛ ثطا٢ اق٥بء ٘ب٘ٛٔم٥بؼ ٔدعاؾز. - ٗادآٍسٕ

 [1388: ؾبَ 12098اؾشب٘ساضز ٣ّٔ ا٤طاٖ، قٕبضٜ  ]ٔٙجٕ: ثطٌطفشٝ قسٜ اظ

 

9-5-57 

 ًاًَولَٗ٘ذ

nanocolloid 

 و٥٤ّٛسٞب٢ ٘ب٘ٛٔم٥بؼ اؾز وٝ زض آٖ ٘ب٘ٛشضار زضٖٚ فبظ ٔب٤ٕ دطاوٙسٜ قسٜ اؾز.

 [1388: ؾبَ 12098اؾشب٘ساضز ٣ّٔ ا٤طاٖ، قٕبضٜ  ]ٔٙجٕ: ثطٌطفشٝ قسٜ اظ
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9-5-58 

 ًاًَهم٘اع

nanoscale 

 اؾز. nm100سب  nm1 بًا٘ساظٜ اظ سمط٤ج ٠ٔحسٚز

٤بث٣ وطز ٚ ثطا٢ چ٥ٙٗ ذٛانر٣، ا٤رٗ حرسٚز ا٘رساظٜ،      سٛاٖ ثطٖٚسط ٣ٕ٘ذٛان٣ ضا وٝ ِعٚٔب اظ ا٘ساظٜ ثعضٌشط ثٝ وٛچه - ٗادآٍسٕ

 سمط٤ج٣ اؾز.

 [1388: ؾبَ 12098اؾشب٘ساضز ٣ّٔ ا٤طاٖ، قٕبضٜ  ]ٔٙجٕ: ثطٌطفشٝ قسٜ اظ

 

9-5-59 

 ًٕؼثت هٌظش

aspect ratio  

"AR" 

-وٝ ٔر٣ ىٙس ٘وٝ ٔحٛض ثعضي اظ ٔطظ شضٜ ٖجٛض  ٍٞٙب٣ٔٚ ٘ؿجز لُط ثعضي ثٝ لُط وٛچه زض ٤ه شضٜ اؾز 

 ٔٛضز اؾشفبزٜ لطاض ٥ٌطز.سٛا٘س 

 ، ثعضٌشط٤ٗ ٔحٛض ث٣ً٥ ُٔٙجك قسٜ ثط شضار غ٥طوط٢ٚ اؾز.ٔحٛض ثعضي - ٗادآٍسٕ

 [ASTM F1877: 2010]ٔٙجٕ: ثطٌطفشٝ قسٜ اظ

 

 گ٘شٕهشتَط تِ اًذاصٍُاطگاى    9-2

9-2-5 

 گ٘شٕ هشجغاػتاًذاسد اًذاصُ

reference measurement standard 

٥ٌرط٢  ؾرب٤ط اؾرشب٘ساضزٞب٢ ا٘رساظٜ    1()ٚاؾرٙد٣ وب٥ِجطاؾر٥ٖٛ   ٔٙٓٛض ثٝوٝ  اؾز ٥ٌط٢ا٘ساظٜ ٢ ثطا٢اؾشب٘ساضز

 .قٛزا٘شربة ٣ٔ ٔكره٣ ؾبظٔبٖ ٤ب ٔىبٖ زض ٞبو٥ٕز

 ثب انلاحبر[1390: ؾبَ 4723اؾشب٘ساضز ٣ّٔ ا٤طاٖ، قٕبضٜ  ]ٔٙجٕ: ثطٌطفشٝ قسٜ اظ
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9-2-2 

 اصلاح

correction 

 .اؾز ٥ٌط٢()زض ٘شب٤ح ا٘ساظٜ ثطآٚضز قسٜ 1ٔٙس ٘ٓبْخجطاٖ ٤ه اثط 

 ثج٥ٙ٥س. ISO/IEC Guide 98-3:2008ضا زض اؾشب٘ساضز  ٔٙس ٘ٓبْسٛي٥ح اثط  -1 ٗادآٍسٕ

ٞب٢ ٔرشّف٣ ا٘دبْ قٛز. ٔب٘ٙس ايبفٝ وطزٖ ٤ه ٔمساض ٤ب يطة وطزٖ زض ٤ره  سٛا٘س ثٝ قى٣ُٔ ٔٙس ٘ٓبْخجطاٖ اثط  -2 ٗادآٍسٕ

 يط٤ت ٤ب اؾشرطاج اظ خسَٚ.

 

9-2-9 

 دُاًذاصُ

measurand 

 اؾز. ٥ٌط٢و٥ٕز ٔٛضز ٘ٓط ثطا٢ ا٘ساظٜ
حبٔرُ و٥ّٕرز،    ٠ٔبز زٜ ٔؿشّعْ آٌب٣ٞ اظ ٘ٛٔ و٥ّٕز، سٛن٥ف ٚي٥ٗز دس٤سٜ، خؿٓ ٤بس٥٥ٗٗ ٔكرهبر ٤ه ا٘ساظٜ -1 ٗادآٍسٕ

 ٞب٢ ٔطثٌٛ ٚ ٔٛخٛز ق٥ٕ٥ب٣٤ زذ٥ُ اؾز.ٞط ٤ه اظ ِٔٛفٝ

2ٚ ٤ٚطا٤ف زْٚ  IEC 60050-300:2001زض اؾشب٘ساضزٞب٢  -2 ٗادآٍسٕ
VIMٜا٢ وٝ ا٘رساظٜ و٥ّٕز ٤ٚػٜ"زٜ ثٝ نٛضر ، ا٘ساظ-

 سٗط٤ف قسٜ اؾز. "قٛز٥ٌط٢ ٣ٔ

قٛز ٚ ٕٔىٗ اؾز دس٤سٜ، ٥ٌط٢ ا٘دبْ ٣ٔا٣ُ٤ اؾز وٝ سحز آٖ ا٘ساظ٥ٌٜط٢ ٚ قطا٘ساظٜ ١ؾبٔب٥ٌ٘ط٢ قبُٔ ا٘ساظٜ -3 ٗادآٍسٕ

، زٜ سٗط٤ف قسٜ، اذشلاف د٥سا وٙس. زض چٙر٥ٗ ٔرٛاضز٢  ٥ٌط٢ ثب ا٘ساظٜا٢ سغ٥٥ط زٞس وٝ و٥ٕز ٔٛضز ا٘ساظٜخؿٓ ٤ب ٔبزٜ ضا ثٝ ٌٛ٘ٝ

 اٖٕبَ انلاح يطٚض٢ اؾز.

 ١زضخر  20ثرب َرَٛ آٖ زض زٔرب٢ ٔكررم      ؾّؿر٥ٛؼ  ١زضخر  23فٛلاز٢ زض سٗبزَ ثب ٔح٣ُ٥ ثرب زٔرب٢    ١ٔثبَ: ََٛ ٤ه ٥ّٔ

 زٜ اؾز(، اذشلاف زاضز. زض چ٥ٙٗ ٔٛاضز٢، اٖٕبَ انلاح يطٚض٢ اؾز.)وٝ ا٘ساظٜ ؾّؿ٥ٛؼ

ٜ "ٞب٣٤ اؾز وٝ ٌب٣ٞ اٚلبر ثرطا٢  ٤ب ٘بْ ٤ه ٔبزٜ ٤ب سطو٥ت، ٚاغٜ 3زض ق٣ٕ٥، آ٘ب٥ِز -4 ٗادآٍسٕ قرٛز.  اؾرشفبزٜ ٔر٣   "زٜا٘رساظ

 وٙس.ٞب اقبضٜ ٣ٕ٘ٞب اقشجبٜ اؾز ظ٤طا ثٝ و٥ٕزاؾشفبزٜ اظ ا٤ٗ ٚاغٜ

 

 

 

                                                 

1- Systematic 

2- International Vocabulary of Metrology (VIM) 

3- Analyte 
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9-2-4 

 ه٘اًگ٘ياًذاصُ 

mean size 

 اؾز. آٟ٘بٞب ثط سٗساز ٞب، وٝ حبنُ سمؿ٥ٓ ٔدٕٛٔ ا٘ساظٜٔشٛؾٍ سٕبْ ا٘ساظٜ

 [BSI-PAS 136: 2007 ]ٔٙجٕ: ثطٌطفشٝ قسٜ اظ

 

9-2-1 

 گ٘شٕاًذاصُ تجذٗذپزٗشٕ

measurement reproducibility 

 اؾز. ٥ٌط٢ا٘ساظٜ سدس٤سدص٤ط٥ٌ٢ط٢ سحز قطا٤ٍ ا٘ساظٜ زلز

 ثب انلاحبر[1390: ؾبَ 4723اؾشب٘ساضز ٣ّٔ ا٤طاٖ، قٕبضٜ  ]ٔٙجٕ: ثطٌطفشٝ قسٜ اظ 

 

 

9-2-6 

 گ٘شٕتىشاسپزٗشٕ اًذاصُ

measurement repeatability 

 اؾز. ٥ٌط٢ا٘ساظٜ ٢اظ قطا٤ٍ سىطاضدص٤ط ا٢ٔد٥ٌٖٕٝٛط٢ سحز ا٘ساظٜ زلز

 ثب انلاحبر[1390: ؾبَ 4723اؾشب٘ساضز ٣ّٔ ا٤طاٖ، قٕبضٜ  ]ٔٙجٕ: ثطٌطفشٝ قسٜ اظ 

 

9-2-7 

 تَصٗغ اًذاصُ رسُ

particle size distribution 

 .سٛظ٤ٕ شضار ثٝ نٛضر سبث٣ٗ اظ ا٘ساظٜ شضار اؾز

ٞرب٢  سٛظ٤ٕ ا٘جبقش٣ ٚ ٤ب چٍب٣ِ سٛظ٤ٕ )سٛظ٤ٕ وؿط حد٣ٕ ٔبزٜ زض ولاؼ ا٘ساظٜ سٛاٖ ثهٛضرضا ٣ٔسٛظ٤ٕ ا٘ساظٜ شضٜ  - ٗادآٍسٕ

 ٔشفبٚر( ث٥بٖ ٕ٘ٛز.

 [ISO-TS 80004-6: 2013 ]ٔٙجٕ: ثطٌطفشٝ قسٜ اظ
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9-2-8 

 گ٘شٕخغإ اًذاصُ

measurement error 

 اؾز. ٔمساض ٔطخٕ ٟٔٙب٥ٌ٢ط٢ قسٜ ا٘ساظٜ و٥ٕز ٔمساض

 :سٛاٖ زض زٚ حبِز ظ٤ط ثٝ وبض ثطزضا ٣ٔ "٥ٌط٢ذُب٢ ا٘ساظٜ"ٔفْٟٛ  -1 ٗادآٍسٕ

ورٝ ٔمرساض و٥ٕرز    -٥ٌرط٢ ا٘رساظٜ اؾشب٘ساضز ٚ ٤ب ٍٞٙب٣ٔ وٝ وب٥ِجطاؾ٥ٖٛ سٛؾٍ  ٔمساض ٔطخٕ ٚخٛز زاضزسه ٤ه ظٔب٣٘ وٝ اِف( 

لرطاضزاز٢  ا٘دبْ ٣ٔ قٛز ٚ ٤ب زض قطا٣ُ٤ وٝ ٤ه ٔمساض و٥ٕز  -٥ٌط٢ ٘بچ٥ع اؾز٥ٌط٢ قس٠ آٖ زاضا٢ ٖسْ ل٥ُٗز ا٘ساظٜا٘ساظٜ

 اضا٤ٝ قسٜ اؾز، ذُب٢ ا٘ساظٜ ٥ٌط٢ ّْٔٗٛ اؾز.

قرٛز زض  ٘بچ٥ع ٘كبٖ زازٜ ٔر٣  ٠زٜ اظ َط٤ك ٤ه سه ٔمساض و٥ٕز ٚال٣ٗ ٤ب ٤ه ٔدٕٖٛٝ ٔمبز٤ط ثب ٌؿشطاٌط فطو قٛز ا٘ساظٜ ة(

  ٥ٌط٢ ّْٔٗٛ اؾز.ذُب٢ ا٘ساظٜ نٛضرا٤ٗ 

 اقشجبٜ ٌطفشٝ قٛز. ٤ب ذُب٢ ا٘ؿب٣٘ ذُب٢ س٥ِٛسثب ٘جب٤س ٥ٌط٢ ذُب٢ ا٘ساظٜ -2 ٗادآٍسٕ

 ثب انلاحبر[ 1390: ؾبَ 4723اؾشب٘ساضز ٣ّٔ ا٤طاٖ، قٕبضٜ  ]ٔٙجٕ: ثطٌطفشٝ قسٜ اظ

 

9-2-9 

 تصادفٖگ٘شٕ خغإ اًذاصُ

random measurement error 

 .وٙس٣ٔث٣ٙ٥ سغ٥٥ط غ٥ط لبثُ د٥ف ثب ٤ه ضٚ٘سٞب ٥ٌط٢وٝ زض سىطاض ا٘ساظٜ اؾز ٥ٌط٢ذُب٢ ا٘ساظٜ اظ ٢أِٛفٝ

سىرطاض٢ ض٢ٚ   ٥ٌرط٢ ا٘رساظٜ  سٗساز ظ٤ربز٢  اظ حبنُ ٥ٔب٥ٍ٘ٗ، سهبزف٥ٌ٣ط٢ ذُب٢ ا٘ساظٜ ثطا٢ٔطخٕ و٥ٕز ٔمساض  -1 ٗادآٍسٕ

 اؾز.   زٜ ٕٞؿب٤ٖه ا٘ساظٜ

سٛا٘رس  وٝ ٔر٣ زٞس ضا سكى٥ُ ٣ٔ سٛظ٣ٗ٤سبثٕ ، سىطاض٢ ٞب٥ٌ٢ط٢اظ ا٘ساظٜ ا٢ٔدٕٖٛٝ سهبزف٥ٌ٣ط٢ ٢ ا٘ساظٜٞبذُب -2 ٗادآٍسٕ

 .آٖ ذلانٝ قٛزٚاض٤ب٘ؽ  قٛز( ٣ٔٚ نفط زض ٘ٓط ٌطفشٝ ٕٔٗٛلا وٝثٝ ا٥ٔس ض٤بي٣ )

 .  ٔٙس ٘ٓب٥ٌْط٢ ذُب٢ ا٘ساظٜ ٟٔٙب٥ٌ٢ط٢ ذُب٢ ا٘ساظٜ ثطاثط اؾز ثب سهبزف٥ٌ٣ط٢ ذُب٢ ا٘ساظٜ -3 ٗادآٍسٕ

 بر[ثب انلاح1390: ؾبَ 4723اؾشب٘ساضز ٣ّٔ ا٤طاٖ، قٕبضٜ  ]ٔٙجٕ: ثطٌطفشٝ قسٜ اظ
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9-2-51 

 هٌذ ًظامگ٘شٕ خغإ اًذاصُ

systematic measurement error 

ث٥ٙر٣  لبثُ در٥ف  ثب ٤ه ضٚ٘س٤ب ٚ  ٔب٘س٣ٔٞب ثبثز ٥ٌط٢وٝ زض سىطاض ا٘ساظٜ اؾز ٥ٌط٢ذُب٢ ا٘ساظٜ ا٢ اظِٔٛفٝ

 .وٙس٣ٔسغ٥٥ط 

٥ٌرط٢  و٥ٕز ٚال٣ٗ ٤ب ٔمساض و٥ٕز ا٘رساظٜ ٔمساض ثطاثط ثب ٤ه  ٔٙس ٘ٓب٥ٌْط٢ ذُب٢ ا٘ساظٜ ثطا٢ٔطخٕ و٥ٕز ٔمساض  -1 ٗادآٍسٕ

  اؾز. -لبثُ نطف ٘ٓط وطزٖ ثب ٔمساض و٥ٕز لطاضزاز٢-٥ٌط٥ٌ٢ط٢ ثب ٖسْ ل٥ُٗز ا٘ساظٜا٘ساظ٤ٜه اؾشب٘ساضز قسٜ 

ٖ ثرطا٢   ّْٔٗٛ ٤ب ٘ربّْٔٗٛ ثبقرس.   سٛا٘س٣آٖ ٔ ُّٖٚ ٔٙس  ٘ٓب٥ٌْط٢ ذُب٢ ا٘ساظٜ -2 ٗادآٍسٕ ٥ٌرط٢  ساظٜا٘ر ٤ره ذُرب٢    خجرطا

 .وطزٕبَ سهح٥ح اٖ سٛأّْٖٗٛ ٣ٔ ٔٙس ٘ٓبْ

 .سهبزف٥ٌ٣ط٢ ذُب٢ ا٘ساظٜ ٟٔٙب٥ٌ٢ط٢ ذُب٢ ا٘ساظٜ ثطاثط اؾز ثب ٔٙس ٘ٓب٥ٌْط٢ ذُب٢ ا٘ساظٜ -3 ٗادآٍسٕ

 ثب انلاحبر[1390: ؾبَ 4723اؾشب٘ساضز ٣ّٔ ا٤طاٖ، قٕبضٜ  ]ٔٙجٕ: ثطٌطفشٝ قسٜ اظ

 

9-2-55 

 گ٘شٕاًذاصُدسػتٖ 

measurement accuracy 

 اؾز. زٜا٘ساظٜ و٥ٕز ٚال٣ٗ اظ ٘ٓط ٤ه ٔمساض ٥ٌٚط٢ قسٜ ا٘ساظٜ و٥ٕز ٔمساض ث٥ٗ لبثُ لجَٛ٘عز٤ى٣ 

٥ٌرط٢ ورٛچىشط   قٛز. ٞطچٝ ذُب٢ ا٘رساظٜ ٢ ث٥بٖ ٣ٕٖ٘سزثب ٔمساض ٚ  ، و٥ٕز ٥٘ؿز"٥ٌط٢زضؾش٣ ا٘ساظٜ"ٔفْٟٛ  -1 ٗادآٍسٕ

 سط اؾز.٥ٌط٢ زضؾزقٛز وٝ ا٘ساظٜثبقس، ٌفشٝ ٣ٔ

وبض ٝ ث ٥ٌط٥ٌ٢ط٢ ٘جب٤س ثطا٢ زضؾش٣ ا٘ساظٜزلز ا٘ساظٜ ٠ٚ ٚاغ ٥ٌط٢ا٘ساظٜ نحز ٘جب٤س ثطا٥ٌ٢ط٢ زضؾش٣ ا٘ساظٜ ٠ٚاغ -2 ٗادآٍسٕ

 قٛز.ضٚز. ٞط چٙس ثٝ ٞط ز٢ٚ ا٤ٗ ٔفب٥ٞٓ ٔطثٌٛ ٣ٔ

زٜ ٘ؿرجز زازٜ  ٥ط٢ قسٜ وٝ ثٝ ا٘رساظٜ ٥ٌٌط٢ ٌب٣ٞ اٚلبر ثٝ نٛضر ٘عز٤ى٣ سٛافك ث٥ٗ ٔمبز٤ط ا٘ساظٜزضؾش٣ ا٘ساظٜ -3 ٗادآٍسٕ

 قٛز.ا٘س، سفؿ٥ط ٣ٔقسٜ

 ثب انلاحبر[ 1390: ؾبَ 4723اؾشب٘ساضز ٣ّٔ ا٤طاٖ، قٕبضٜ  ]ٔٙجٕ: ثطٌطفشٝ قسٜ اظ
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9-2-52 

 گ٘شٕاًذاصُ دلت

measurement precision 

ٕٞربٖ   ٞب ض٥ٌ٢ٚط٢ا٘ساظٜسىطاض  حبن٥ٌُط٢ قسٜ ا٘ساظٜ ثب ٔمبز٤ط و٥ٕز 1ٞب٘كب٘س٣ٞث٥ٗ  لبثُ لجَٛ٘عز٤ى٣ 

 اؾز.  ٔكبثٝ آٖ سحز قطا٤ٍ ٔكرم ٕ٘ٛ٘ٝ ٤بقطا٤ٍ 

قرٛز.  ذربل ث٥ربٖ ٔر٣    ٥ٌرط٢ ثٝ نٛضر ٖسز٢ ٚ ثط حؿت ٖسْ زلز سحز قطا٤ٍ ا٘ساظ٥ٌٜط٢ ٕٔٗٛلا ا٘ساظٜ زلز -1 ٗادآٍسٕ

 قٛز.ث٥بٖ ٣ٔ 2ٚاض٤ب٘ؽ٤ب يط٤ت ٚ ٔب٘ٙس ا٘حطاف اظ ٥ٗٔبض، ٚاض٤ب٘ؽ 

٥ٌط٢ ٚ ٤رب قرطا٤ٍ   ، قطا٤ٍ ٣ِٕٛٗٔ ا٘ساظ٥ٌ3ٜط٢ا٘ساظٜ سٛا٘س قطا٤ٍ سىطاضدص٤ط٣ٔ٢ ثٝ ٖٙٛاٖ ٔثبَقطا٤ٍ ٔكرم  -2 ٗادآٍسٕ

 ثبقس. ٥ٌ4ط٢ا٘ساظٜ سدس٤سدص٤ط٢

وربض  ٝ ثر   ٥ٌط٢ا٘ساظٜ سدس٤سدص٤ط٥ٌ٢ط٢ ٚ ا٘ساظٜزلز ٥ٔب٣٘ ٥ٌط٢، ا٘ساظٜ ٥ٌط٢ ثطا٢ سٗط٤ف سىطاضدص٤ط٢ا٘ساظٜزلز  -3 ٗادآٍسٕ

 .ٚزض٣ٔ

 ضٚز.  ثىبض ٥ٌ٣ٔط٢ ا٘ساظٜ ثٝ ٔفْٟٛ زضؾش٣ ٥ٌط٢ا٘ساظٜ زلز ٠ٚاغ ثٝ اقشجبٜ اٚلبر ٌب٣ٞ -4 ٗادآٍسٕ

 ثب انلاحبر[1390: ؾبَ 4723اؾشب٘ساضز ٣ّٔ ا٤طاٖ، قٕبضٜ  ]ٔٙجٕ: ثطٌطفشٝ قسٜ اظ

 

9-2-59 

 ٕگ٘شاًذاصُ صحت

measurement trueness 

و٥ٕرز  ٔمرساض   ٠ سىرطاض٢ ٚ قس٥ٌط٢اظ ٔمبز٤ط ا٘ساظٜ ٘بٔشٙب٣ٞسٗساز لبثُ لجَٛ ث٥ٗ ٥ٔب٥ٍ٘ٗ حبنُ اظ ٘عز٤ى٣ 

 اؾز. ٔطخٕ

٢ ث٥بٖ وطز، أب زض اؾشب٘ساضز ثٝ نٛضر ٖسز سٛاٖ آٖ ضا٣ٕ٘ ٥٘ؿز ٚ ثٙبثطا٤ٗ ٤ه و٥ٕز، ٥ٌط٢ا٘ساظٜ ٔفْٟٛ نحز -1 ٗادآٍسٕ

 قسٜ اؾز. ٥ٗٔبضٞب٢ ٔطثٌٛ ثٝ ٘عز٤ى٣ سٛافك زازٜ ٣ّٔ7442 قٕبض٠ 

-ذُب٢ ا٘ساظٜ بأب اضسجب٣َ ثوٙس اضسجبٌ د٥سا ٣ٔ ٔٙس ٥ٌط٢ ٘ٓبْذُب٢ ا٘ساظٜ َٝٛض ٔٗىٛؼ ثٝ ٥ٌط٢ ثا٘ساظٜ حزن -2 ٗادآٍسٕ

 ٘ساضز. ٥ٌط٢ سهبزف٣

 .قٛزاؾشفبزٜ ٤ب ثطٖىؽ ٥ٌط٢ ا٘ساظٜ نحز ثطا٥ٌ٢ط٢ ٘جب٤س ا٘ساظٜ ٚاغ٠ زضؾش٣ -3 ٗادآٍسٕ

 ثب انلاحبر[1390: ؾبَ 4723]ٔٙجٕ: ثطٌطفشٝ قسٜ اظ اؾشب٘ساضز ٣ّٔ ا٤طاٖ، قٕبضٜ 

                                                 

1- Indications 

2- Variation coefficient 

3- Repeatability 

4- Reproducibility 
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9-2-54 

 گ٘شٕػذم لغؼ٘ت اًذاصُ

measurement uncertainty 

زٜ ثرٝ ا٘رساظٜ   )وٝ ثط اؾربؼ اَلاٖربر ٔرٛضز اؾرشفبزٜ    و٥ٕز ضا  ٔمبز٤ط دطاوٙس٣ٌوٝ  اؾز ٔٙف٣غ٥ط دبضأشط٢

  وٙس.ٔكرم ٣ٔ (٘ؿجز زازٜ قسٜ اؾز

ٞرب ٚ ٔمربز٤ط   ٞب٢ ٔطثٌٛ ثرٝ سهرح٥ح  ٔب٘ٙس ِٔٛفٝ، ٔٙس ٘ٓبْ آثبض ٘بق٣ اظٞب٣٤ ِٔٛف٥ٌٝط٢ قبُٔ ٖسْ ل٥ُٗز ا٘ساظٜ -1 ٗادآٍسٕ

ْ . ٌرب٣ٞ اثرطار   اؾرز  ٥ٌط٢ ٚ ٕٞچ٥ٙٗ ٖسْ ل٥ُٗز سٗط٤ف٣اؾشب٘ساضزٞب٢ ا٘ساظٜ ١و٥ٕز سره٥م ٤بفش  قرسٜ،  ثرطآٚضز  ٔٙرس  ٘ٓرب

 قٛ٘س.ٔطثٌٛ ٌٙدب٘سٜ ٥ٌ٣ٔط٢ ٖسْ ل٥ُٗز ا٘ساظٜ ٞب٢ِٔٛفٝ قٛ٘س ٚ ثدب٢ آٖسهح٥ح ٣ٕ٘

٥ٌرط٢  سٛا٘س ا٘حطاف اظ ٥ٗٔبض ٚ ٤ب ًٔطة ٔكره٣ اظ آٖ وٝ ٖرسْ ل٥ُٗرز اؾرشب٘ساضز ا٘رساظٜ    ثطا٢ ٔثبَ، دبضأشط ٣ٔ -2 ٗادآٍسٕ

 ا٢ زاضز.ا٢ ثبقس وٝ احشٕبَ دٛقف اْٟبض قسٜدٟٙب٢ ثبظٜقٛز ٤ب ٥٘ٓ٘ب٥ٔسٜ ٣ٔ

٥ٌط٢ ٔطسجٍ ثب ٤ه ٔمساض و٣ٕ ل٥ُٗز ا٘ساظٜثطا٢ ٔدٕٖٛٝ اَلاٖبر زازٜ قسٜ، ثس٣ٟ٤ اؾز وٝ ٖسْ  ،و٣ّ ثٝ َٛض -3 ٗادآٍسٕ

 قٛز.  قٛز. ٞط سغ٥٥ط٢ زض ا٤ٗ ٔمساض، ٔٙدط ثٝ سغ٥٥ط زض ٖسْ ل٥ُٗز ٔطثٌٛ ٣ٔزٜ ٘ؿجز زازٜ ٣ٔث٥بٖ قسٜ اؾز وٝ ثٝ ا٘ساظٜ

 ثب انلاحبر[1390: ؾبَ 4723اؾشب٘ساضز ٣ّٔ ا٤طاٖ، قٕبضٜ  ]ٔٙجٕ: ثطٌطفشٝ قسٜ اظ

 

9-2-51 

 ختٖؿٌا اًذاصُ لاتل٘ت سدٗاتٖ

metrological traceability 

 ١٘بٌؿؿش ٠سٛاٖ ٘ش٥دٝ ضا ثٝ ٤ه ٔطخٕ اظ َط٤ك ظ٘د٥طسٛؾٍ آٖ ٣ٔوٝ  اؾز ٥ٌط٤٢ه ٘ش٥دٝ ا٘ساظٜ ١ذه٥ه

 ٥ٌط٢ زذ٥ُ ٞؿشٙس.اضسجبٌ زاز وٝ ٞط٤ه زض ٖسْ ل٥ُٗز ا٘ساظٜ ٞب ٥ٖٛوب٥ِجطاؾٔؿشٙس 

اظ َط٤رك دس٤رسآٚض٢ ّٖٕر٣ آٖ ٤رب      ٥ٌرط٢ ا٘ساظٜ ٤ىب٢ سٗط٤فسٛا٘س ٣ٔوٝ زض ا٤ٗ سٗط٤ف آٔسٜ اؾز،  "ٔطخٕ" ٠ٚاغ -1 ٗادآٍسٕ

   ٥ٌط٢ ثبقس.٥ٌط٢ ثطا٢ ٤ه و٥ٕز غ٥طسطس٥ج٣ ٚ ٤ب اؾشب٘ساضز ا٘ساظ٥ٌٜط٢ قبُٔ ٤ىب٢ ا٘ساظٜضٚـ اخطا٣٤ ا٘ساظٜ

 طاؾ٥ٖٛ ٥٘بظ زاضز.ج٥ٔطاست وبِ ؾّؿّٝ ثطلطاض٢ثٝ  قٙبذش٣ا٘ساظٜ لبث٥ّز ضز٤بث٣ -2 ٗادآٍسٕ

 وب٥ِجطاؾر٥ٖٛ )ٚاؾرٙد٣(  ٔكرهبر ٔطخٕ ثب٤س قبُٔ سبض٤ر٣ وٝ زض آٖ، ا٤ٗ ٔطخٕ ثطا٢ ثطلطاض٢ ؾّؿرّٝ ٔطاسرت    -3 ٗادآٍسٕ

زض ؾّؿّٝ ٔطاسرت  وب٥ِجطاؾ٥ٖٛ چٝ ٔٛلٕ ا٥ِٚٗ ٔطخٕ ٔب٘ٙس ا٤ٙىٝ  ٠قٙبذش٣ ز٤ٍط٢ زضثبضثىبض ضفشٝ اؾز ٚ ٥٘ع ٞط اَلاٖبر ا٘ساظٜ

   قسٜ اؾز، ثبقس. ا٘دبْوب٥ِجطاؾ٥ٖٛ 

 لبث٥ّرز  ذرٛز ٚضٚز٢ ثب٤س ٤ه اظ ٔمبز٤ط ٥ٌط٢، ٞط ثب ث٥ف اظ ٤ه و٥ٕز ٚضٚز٢ زض ٔسَ ا٘ساظٜ ٣ٞب٥ٌ٤ط٢ا٘ساظٜ زض -4 ٗادآٍسٕ

-ا٘رساظٜ لبث٥ّز ضز٤ربث٣   سلاـ زض ثطلطاض٢. سكى٥ُ زٞسا٘كٗبث٣ سٛا٘س ٣ٔوب٥ِجطاؾ٥ٖٛ  ثبقس ٚ سٛا٣ِ زاقز قٙبذش٣ا٘ساظٜ ضز٤بث٣

 ٥ٌط٢ ثبقس.زض ٘ش٥دٝ ا٘ساظٜ ثب٤س ٔشٙبؾت ثب ؾٟٓ ٔطثٌٛ ثٝ ٞط ٤ه اظ آٟ٘بٚضٚز٢ ٞب٢ زو٥ٕ ٢ ٞط ٤ه اظقٙبذش٣ ثطا

٥ٌرط٢ ثرطا٢   زٞس وٝ ٖسْ ل٥ُٗز ا٘رساظٜ ا٤ٗ ا٥َٕٙبٖ ضا ٥ٌ٣ٕ٘ط٢، ا٘ساظٜ ٤١ه ٘ش٥د قٙبذش٣ا٘ساظٜ لبث٥ّز ضز٤بث٣ -5 ٗادآٍسٕ

  ٚخٛز زاضز.ٞسف ٔٛضز ٘ٓط ٔٙبؾت اؾز ٤ب ا٤ٙىٝ ذُب٢ ا٘ؿب٣٘ 
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ٌطفز وٝ ثرطا٢ ثطضؾر٣ اؾرشفبزٜ    زض ٘ٓط وب٥ِجطاؾ٥ٖٛ سٛاٖ ٥ٌط٢ ضا زض نٛضس٣ ٣ٔث٥ٗ زٚ اؾشب٘ساضز ا٘ساظٜ ١ٔمب٤ؿ -6 ٗادآٍسٕ

٥ٌرط٢  ٥ٌط٢ ٘ؿجز زازٜ قسٜ ثٝ ٤ى٣ اظ اؾشب٘ساضزٞب٢ ا٘ساظ٥ٌٜط٢ قسٜ ٚ ٖسْ ل٥ُٗز ا٘ساظٜقٛز ٚ زض نٛضر ِعْٚ ٔمبز٤ط ا٘ساظٜ

 سهح٥ح ٌطزز.  

 ثب انلاحبر[1390: ؾبَ 4723اؾشب٘ساضز ٣ّٔ ا٤طاٖ، قٕبضٜ  جٕ: ثطٌطفشٝ قسٜ اظ]ٔٙ

 

9-2-56 

  وال٘ثشاػَ٘ى )ٍاػٌجٖ(

calibration 

قٛز. ثٝ َٛض٢ وٝ زض ا٥ِٚٗ ٌبْ، ث٥ٗ ٔمبز٤ط و٥ٕز ٚ ٖرسْ  ٥ّٕٖبس٣ اؾز وٝ، سحز قطا٤ٍ ٔكرم ا٘دبْ ٣ٔ

-٥ٌط٢ سٛؾٍ اؾشب٘ساضزٞب٢ ا٘رساظٜ ٞب٢ ا٘ساظٜل٥ُٗز ٖسْوٙس. ا٤ٗ ٥ٌط٢ اضسجبٌ ثطلطاض ٣ٔٞب٢ ا٘ساظٜل٥ُٗز

قٛز ٚ زض ٌربْ زْٚ، اظ  ٥ٌط٢ ٔطثٌٛ فطاٞٓ ٣ٔٞب٢ ا٘ساظٜٞب٢ ٔشٙبْط، ثٝ ٕٞطاٜ ٖسْ ل٥ُٗز٥ٌط٢ ٚ ٘كب٘س٣ٞ

 قٛز. ٥ٌط٢ اظ ٘كب٘س٣ٞ اؾشفبزٜ ٣ٔا٢ خٟز زؾش٥بث٣ ثٝ ٘ش٥د١ ا٘ساظٜا٤ٗ اَلاٖبر ثطا٢ ثطلطاض٢ ضاثُٝ

سٛا٘رس ثرب اْٟبض٤رٝ، سربثٕ وب٥ِجطاؾر٥ٖٛ، ٕ٘رٛزاض وب٥ِجطاؾر٥ٖٛ، ٔٙحٙر٣ وب٥ِجطاؾر٥ٖٛ ٤رب خرساَٚ            ٣ٔوب٥ِجطاؾ٥ٖٛ  -1 ٗادآٍسٕ

وب٥ِجطاؾ٥ٖٛ ث٥بٖ قٛز. زض ثطذ٣ حبلار ٥٘ع ٔمساض سهح٥ح ٘كب٘س٣ٞ ثهٛضر ايبفٝ وطزٖ ٤ه ٔمساض ٤رب يرطة زض ٤ره يرط٤ت،     

 قٛز. ٥ٌط٢ زازٜ ٣ٕٔٞطاٜ ثب ٖسْ ل٥ُٗز ا٘ساظٜ

٥ٌ1ط٢ا٘ساظٜ ١س٥ٓٙٓ ؾبٔب٘"وب٥ِجطاؾ٥ٖٛ ٘جب٤س ثب  -2 ٗادآٍسٕ
 ٤رب ثرب  قرٛز ٚ  ٔر٣  ٘ب٥ٔرسٜ  "ذٛزوب٥ِجطاؾ٥ٖٛ" اقشجبٞبً اغّتوٝ  "

2وب٥ِجطاؾ٥ٖٛ سهس٤ك"
 اقشجبٜ ٌطفشٝ قٛز. "

 قٛز.اغّت ٔطح١ّ اَٚ زض سٗط٤ف ثبلا ثٝ سٟٙب٣٤ وب٥ِجطاؾ٥ٖٛ قٙبذشٝ ٣ٔ -3 ٗادآٍسٕ

 ثب انلاحبر[1390: ؾبَ ٣ّٔ4723 ا٤طاٖ، قٕبضٜ ]ٔٙجٕ: ثطٌطفشٝ قسٜ اظ اؾشب٘ساضز 

 

9-2-57 

 هشجغ ٓهاد

reference material 

"RM" 

 ثٝ وفب٤ز ٍٕٞرٗ ٚ دب٤رساض   ٥ٌط٢ )ٔب٘ٙس ََٛ(،ٔٛضز ٘ٓط ثطا٢ ا٘ساظٜ ٞب٢ ٤ٚػ٣ٌوٝ زض ذهٛل اؾز  ا٢ٔبزٜ

 اؾز.٥ٌط٢ ٤ب أشحبٖ( ٔكرم ا٘ساظٜ )خٟز ٤ٚػ٣ٌاؾز ٚ ٔمساض آٖ 

                                                 

1- Adjustment of calibration system 

2- Verification of calibration 
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قرٛز. ا٤رٗ ٖرسْ ل٥ُٗرز، ٖرسْ ل٥ُٗرز       ٘ب٣ٔ ٚ ٖسْ ل٥ُٗز آٖ ٔر٣  ١٘ب٣ٔ ٔٙدط ثٝ ٔمساض ذه٥ه ٤ٚػ٣ٌ آظٖٔٛ -1 ٗادآٍسٕ

  .٥ٌط٢ ٥٘ؿزا٘ساظٜ

٥ٌط٢ ٔرٛضز اؾرشفبزٜ   سٛاٖ زض وٙشطَ زلز ا٘ساظٜ ٔٛاز ٔطخٕ ثب ٔمبز٤ط و٥ٕز اذشهبل زازٜ قسٜ ٤ب ثسٖٚ آٖ ضا ٣ٔ -2 ٗادآٍسٕ

-٥ٌط٢ ٤٣ٔب وٙشطَ نحز ا٘ساظٜوب٥ِجطاؾ٥ٖٛ لطاض زاز. زض حب٥ِىٝ فمٍ اظ ٔٛاز ٔطخٕ ثب ٔمبز٤ط و٥ٕز اذشهبل زازٜ قسٜ ثطا٢ 

 سٛاٖ اؾشفبزٜ وطز.  

 .ثبقٙس٣ٔ٘ب٣ٔ  ٞب٢   ٤ٚػ٣ٌ ٔٛاز ٚ ٕٞچ٥ٙٗ ٠وٙٙسٞب٢ ٔدؿٓو٥ٕزٔٛاز ٔطخٕ، قبُٔ  -3 ٗادآٍسٕ

 ٞب٢ ٔٛاز ٔطخٕ:٥ز٣ اظ ؤٕثبِ 1ٔثبَ 

 قٛز.اؾشفبزٜ ٣ٔ 2ؾٙحٌطا٘ط٢ٚ وب٥ِجطاؾ٥ٖٛوٝ ثطا٢  ٔكرمز٤ٙب٥ٔه  1آة ثب ذّٛل ٚ ٌطا٘ط٢ٚ

 :٘ب٣ٔ ضا زضثط زاض٘س ٞب٢   ٤ٚػ٣ٌوٝ ٔٛاز ٔطخٕ ٞب٣٤ اظ ٔثبَ 2ٔثبَ 

 ٤ه ٤ب چٙس ضً٘ ٔكرم. ٔطثٌٛ ثٝ ضًٕ٘٘ٛزاض اِف( خسَٚ 

 ِ٘ٛىئٛس٥س ٔكرم. قبُٔ ضقشٝ DNA ة( سطو٥ت

 ثىبض ثطز.س٥ًٕٗ و٥ف٥ز ٤ب  وب٥ِجطاؾ٥ٖٛثطا٢ فمٍ سٛاٖ ٣ّْٔٔٗٛ ضا ٔطخٕ  ٔبز٤ٜه ، ٥ٌّْٛٗٔط٢ زض ٤ه ا٘ساظٜ -4 ٗادآٍسٕ

 ثب انلاحبر[1390: ؾبَ 4723اؾشب٘ساضز ٣ّٔ ا٤طاٖ، قٕبضٜ  ]ٔٙجٕ: ثطٌطفشٝ قسٜ اظ

 

9-2-58 

 ؿذُگَاّٖهادُ هشجغ 

certified reference material 

 ـ ٔطخٕ نبزض قسٜٟ٘بز  وٝ اظ ؾ٢ٛ ٤ه ٔؿشٙساس٣ٕٞطاٜ  ، ثٝٔطخٕ ٢أبزٜ ٞرب٢ اخطا٤ر٣   ٚ ثب اؾرشفبزٜ اظ ضٚ

ٞب٢ ٔطثٌٛ فرطاٞٓ  ٞب ٚ لبث٥ّز ضز٤بث٣ٔكره٣ ضا ثب ٖسْ ل٥ُٗز ١ٔٗشجط، ٤ه ٤ب چٙس ٔمساض ٔطثٌٛ ثٝ ذه٥ه

  وٙس.٣ٔ

 ٔطاخٗٝ قٛز(.  ISO Guide 31:2000قٛز )ثٝاضائٝ ٣ٔ ٤3ه ٌٛا٥ٞٙبٔٝٔؿشٙسار ثٝ نٛضر  -1 ٗادآٍسٕ

 ISO Guide 34   ٚ ISO Guide 35 ثرٝ ٖٙرٛاٖ ٔثربَ زض   ٔطخٕ سب٥٤رس قرسٜ    ٔٛاز ٌٛا٣ٞس٥ِٛس ٚ  اخطا٣٤ ضٚـ -2 ٗادآٍسٕ

 اؾز. ٔكرم قسٜ

-ا٘رساظٜ قٙبذش٣ ثرب ٖرسْ ل٥ُٗرز    لبث٥ّز ضز٤بث٣ ا٘ساظٜ ثطا٢ ٔمبز٤ط و٥ٕز ٔكرم قسٜ ٔٛاز ٔطخٕ ٌٛا٣ٞ قسٜ، -3 ٗادآٍسٕ

 لاظْ اؾز.  ٝٔطث٥ٌَٛط٢ 

 ثب انلاحبر[1390: ؾبَ 4723اؾشب٘ساضز ٣ّٔ ا٤طاٖ، قٕبضٜ  ]ٔٙجٕ: ثطٌطفشٝ قسٜ اظ

                                                 

1- Viscosity 

2- Viscometer 

3- Certificate 
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9-2-59 

 هذُ اًذاصُ 

mode size 

 اؾز. اوثط٤ز( ٠)ا٘ساظزض سٛظ٤ٕ ا٘ساظٜ  لّّٝا٘ساظٜ 

 [BSI-PAS 136: 2007 ]ٔٙجٕ: ثطٌطفشٝ قسٜ اظ

 

9-2-21 

 وال٘ثشاػَ٘ى هٌحٌٖ 

calibration curve 

 ٔشٙبْط ثب آٖ اؾز.قسٜ ٥ٌط٢ٚ ٔمساض و٥ٕز ا٘ساظٜث٥ٗ ٘كب٘س٣ٞ ضاثُٝ ث٥بٖ 

ٖرسْ   ٥ٌ٠رط٢ ٞر٥ح اَلاٖربس٣ زضثربض    ا٘ساظٜ وٝ ٘ش٥دٝ ٢َٛض ثٝاؾز. ٤ه ثٝ ٤ه  ١ث٥بٖ ٤ه ضاثُوب٥ِجطاؾ٥ٖٛ ٔٙح٣ٙ  - ٗادآٍسٕ

 ٘ساضز. ٥ٌط٢ل٥ُٗز ا٘ساظٜ

 ثب انلاحبر[1390: ؾبَ 4723اؾشب٘ساضز ٣ّٔ ا٤طاٖ، قٕبضٜ  ]ٔٙجٕ: ثطٌطفشٝ قسٜ اظ

 

9-2-25 

 لاًًَٖ ؿٌاػٖ ًاًَاًذاصُ

legal nanometrology 
٘ب٘ٛ وٝ ٔؿشم٥ٕب سحز ٘ٓبضر ٚ  بر ٔطثٌٛ ثٝ ا٘ساظٜ ٥ٌط٢ ٞب٢ حٛظ٠ فٙبٚض٢سٕبْ فطآ٤ٙسٞب، فٗب٥ِز ٞب ٚ ٥ّٕٖ

 ٔمطضار لب٣٘ٛ٘ زِٚز ٚ ٤ب ٟ٘بز٢ ثٝ ٕ٘ب٤ٙس٣ٌ زِٚز ا٘دبْ ٣ٔ قٛز. 

 

9-2-22 

 ػلوٖ ؿٌاػٖ ًاًَاًذاصُ

scientific nanometrology 

٥ٌط٢ ثطا٢ سٗط٤ف ٚ سحمك و٥ٕشٟب٢ ٖجبضر اظ ّٖٓ ا٘ساظٜ ٥ٌط٢ ٚ وبضثطز آٖ زض ثٝ وبض٥ٌط٢ ضٚقٟب٢ ا٘ساظٜ

حٛظ٠ فٙبٚض٢ قٙبذش٣ زض  ثطآٚضز ٖسْ ل٥ُٗز ا٘ساظٜ ٥ٌط٢ ٚ ثطلطاض٢ لبث٥ّز ضز٤بث٣ ا٘ساظٜ ٥ٌط٢،لبثُ ا٘ساظٜ

 اؾز. ٘ب٘ٛ
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9-2-29 

 صٌؼتٖ ؿٌاػٖ ًاًَاًذاصُ

industrial nanometrology 
ٔرٛضز  ٚ ٕٞچ٥ٙٗ فطا٤ٙرسٞب٢  ٖجبضر اظ زا٘ف ؾبذز، وبضثطز، ٍٟ٘ساض٢ ٚ وٙشطَ ّٖٕىطز ٚؾب٤ُ ا٘ساظٜ ٥ٌط٢ 

 ٘ب٘ٛ اؾز. حٛظ٠ فٙبٚض٢اؾشفبزٜ زض 

 

 ًاًَهَاد ٗاتٖهـخصِ ّإدػتگاُّا ٍ هفاّ٘ن، سٍؽٍاطگاى هشتَط تِ    9-9

 ًَسپَٗا پشاوٌذگٖ ٍاطگاى هشتَط تِ سٍؽ 9-9-5

9-9-5-5 

 آٌّگ ؿذت پشتَّإ پشاوٌذُ ؿذُ 

count rate photocurrent (Is) scattered intensity  

ٞرب٢ سبث٥رسٜ قرسٜ ثرب      اؾز. زض ُٖٕ سٗساز فٛسٖٛقسٜ ثٝ ٚؾ١ّ٥ شضار  قسر ٘ٛض دطاوٙسٜ دطاوٙس٣ٌ،زض حدٓ 

 قٛز( ٔشٙبؾت اؾز. ٥ٌط٢ ٣ٔ قسر ٘ٛض دطاوٙسٜ قسٜ )وٝ سٛؾٍ آقىبضؾبظ ا٘ساظٜ

 [ISO 13321:1996]ٔٙجٕ: ثطٌطفشٝ قسٜ اظ 

 

9-9-5-2 

 دٌّذُ استثاط

correlator 

 وٙس. ٔحبؾجٝ ٣ٔ ٥ّٗٔٗظٔب٣٘  ثبظ٥ٔ٠عاٖ قجبٞز ث٥ٗ قسر زٚ ؾ٥ٍٙبَ زض ٤ه ا٢ وٝ  ٚؾ٥ّٝ

 [ISO 13321:1996]ٔٙجٕ: ثطٌطفشٝ قسٜ اظ 

 

9-9-5-9 

 حجن پشاوٌذگٖ 

scattering volume (V) 
 قٛز. آقىبضؾبظ زض٤بفز ٣ٔ ٚؾ١ّ٥ثرك٣ اظ دطسٛ ٥ِعض فطٚز٢ وٝ ثٝ 

 ؾب٘ش٣ ٔشط ٔىٗت اؾز. 10-6 اظ ٔطسج١ ٕٔٗٛلاًٙس٣ٌ وحدٓ دطا - ٗادآٍسٕ

 [ISO 13321:1996]ٔٙجٕ: ثطٌطفشٝ قسٜ اظ 
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9-9-5-4 

 ًٖاٍتشحشوت 

brownian motion 

 .قٛز ٣ٔ ٌفشٝ ثطا٣٘ٚ حطوز ؾبظ( شضار،دطاوٙسٜ ٞب٢ ِٔٛىَٛ ؾ٢ٛ اظ ٥٘طٚ اٖٕبَ )٘بق٣ اظ  سهبزف٣ حطوز ثٝ

 [ISO 13321:1996]ٔٙجٕ: ثطٌطفشٝ قسٜ اظ 

 

9-9-5-1 

 پشاوٌذگٖ تغؿاخص 

polydispersity index (pdi, PI) 
 اؾز. ٌؿشطز٣ٌ سٛظ٤ٕ شضٜثطا٢ ث٥بٖ و٥ٕش٣ ثب ثُٗسِ ٤ه، 

 [ISO 13321:1996]ٔٙجٕ: ثطٌطفشٝ قسٜ اظ 

 

9-9-5-6 

 هتَػظ لغش رسُ

average particle diameter (XDLS) 

 .اؾزقسر ٘ٛض  ٕٞبًٞٙ ٥ٔب٥ٍ٘ٗ اظ حبنُ ٔشٛؾٍ لُط

 

 پشتَ اٗىغپشاؽ  ٍاطگاى هشتَط تِ سٍؽ  9-9-2

9-9-2-5 

  للِّؿذت  ّإ گ٘شٕاًذاصُ

peak intensity measurements 

 ٔكرم اؾز. دطاـِ ثطا٢ ل١ّّقسر ٤ىذبضچ١ ٤ه 

 [BS-EN 13925-1]ٔٙجٕ: ثطٌطفشٝ قسٜ اظ  

 

9-9-2-2 

  تلَسن

crystallite 
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ضا ثٝ َٛض ٔٙؿدٓ دطاـ  ىؽ٤ا ٢ٔبزٜ وٝ دطسٛٞب ه٤( قٛز ٣ٔ ف٤سٗط 1حٛظٜ)اغّت ثٝ ٖٙٛاٖ  ٣٤فًب ٠ٔحسٚز

 .زٞس ٣ٔ

 اؾز. ٢2ٔبزٜ چٙسثّٛض ه٤اظ  ٣، ثّٛضن ٕٔٗٛلا ثركXRD ضٚـ زض – ٗادآٍسٕ

 

9-9-2-9 

 پشاؽ پشتَ اٗىغخظ  پْي ؿذگٖ

x-ray diffraction line broadening  

"XRDLB" 

ٞب٢ زثب٢ )ذٌُٛ دطسٛ وٝ زض آٖ حّمnm 1/0ٝضٚق٣ ثطا٢ ؾٙدف ا٘ساظٜ ٚ وط٘ف ثّٛضٞب٢ ٔٙفطز زض ٔم٥بؼ 

 قٛ٘س.سط ٣ٔدٟٗا٤ىؽ( س٥ِٛس قسٜ، 

 دطسٛ ا٤ىؽ قٛز. دٟٗ قسٖ ل١ّّوط٘ف زض ٔبزٜ ٥٘ع ٕٔىٗ اؾز ٔٛخت  - ٗادآٍسٕ

 [BSI-PAS 136: 2007 ]ٔٙجٕ: ثطٌطفشٝ قسٜ اظ

 

9-9-2-4 

 تشج٘حٖ ٗافتگٖجْت

preferred orientation 

 ا٤ىؽ اؾز. دطسٕٛ٘ٛ٘ٝ زض آظٔب٤ف دطاـ  ض٤عؾبذشبضٞب ٘ؿجز ثٝ زا٘ٝ سهبزف٥ٌ٣ط٢ غ٥طخٟز

 [BS-EN 13925-1]ٔٙجٕ: ثطٌطفشٝ قسٜ اظ 

 

9-9-2-1 

 حجن تحت تاتؾ 

irradiated volume 

 ٕ٘ب٤س.قسٜ ضا س٥ِٛس ٣ٔ ٥سٜدطاقا٤ىؽ  دطسٛحد٣ٕ اظ ٕ٘ٛ٘ٝ وٝ ؾ٥ٍٙبَ 

 [BS-EN 13925-1]ٔٙجٕ: ثطٌطفشٝ قسٜ اظ 

 

                                                 

1- Domain 

2- Polycrystalline 
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9-9-2-6 

 خظ پشاؽ

diffraction line 

 اؾز.  ثّٛض٢نفحبر شٙبْط ثب دطاـ ا٘دبْ قسٜ اظ زؾشٝث٥ك٥ٙٝ ٚ ٔ ا٢ اظ ا٢ٍِٛ دطاـ وٝ زاضا٢ قسر٘بح٥ٝ

 قٛز.٥٘ع اؾشفبزٜ ٣ٔ "ا٘ٗىبؼ ثطاي"ٚ  "ا٘ٗىبؼ"، "لّّٝ" ذٍ دطاـ، اظ ٌب٣ٞ ثٝ خب٢ – ٗادآٍسٕ

 [BS-EN 13925-1]ٔٙجٕ: ثطٌطفشٝ قسٜ اظ 

 

9-9-2-7 

  إصفحِفاصلٔ ه٘اى

interplanar spacing 

 .اؾز ثّٛض٢بن١ّ ٖٕٛز ٥ٔبٖ زٚ خفز نفح١ ٔٛاظ٢ زض قجى١ ف

 [ASTM E 1426 ]ٔٙجٕ: ثطٌطفشٝ قسٜ اظ 

 

9-9-2-8 

 تٌؾ /ولاىاوشٍتٌؾه

macrostress 

 .اؾز ٢ثّٛضچٙسا٢ اظ ١ٕ٘ٛ٘ ٔشٛؾٍ سٙف اٖٕب٣ِ ثط ض٢ٚ ٘بح٥ٝ

 [ASTM E 1426 ]ٔٙجٕ: ثطٌطفشٝ قسٜ اظ

 

 ه٘ىشٍػىَپٖ الىتشًٍٖ سٍتـٖ ٍاطگاى هشتَط تِ سٍؽ 9-9-9

 إمغًِ آًال٘ض 9-9-9-5

point analysis 

ثرط ض٢ٚ ٤ره ٘مُرٝ اظ ٕ٘ٛ٘رٝ لرطاض ٌطفشرٝ ٚ حر٥ٗ         ثبض٤ى١ اِىشطٖٚثٝ زؾز آٔسٜ زض قطا٣ُ٤ اؾز وٝ  آ٘ب٥ِع

 ٢ ثط ض٢ٚ آٖ ٘مُٝ ثبثز ٍ٘بٜ زاقشٝ قٛز.ٍ٘بض ٥َف

 [1390: ؾبَ 14095اؾشب٘ساضز ٣ّٔ ا٤طاٖ، قٕبضٜ  ]ٔٙجٕ: ثطٌطفشٝ قسٜ اظ
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9-9-9-2 

 الىتشٍى تشگـتٖ

backscattered electron 

 اِىشطٖٚ دطسبث٣ اظ ؾُح ٚضٚز٢ ٕ٘ٛ٘ٝ سٛؾٍ فطآ٤ٙس ثطٌكش٣ اؾز.

 ٌطفز.ٖٙٛاٖ اِىشطٖٚ ثطٌكش٣ زض ٘ٓط ٝسٛاٖ ثضا ٣ٔ eV 50َجك سٛافك، اِىشطٖٚ دطسبة قسٜ ثب ا٘طغ٢ ث٥ف اظ  -1 ٗادآٍسٕ

 [1390: ؾبَ 14095اؾشب٘ساضز ٣ّٔ ا٤طاٖ، قٕبضٜ  ]ٔٙجٕ: ثطٌطفشٝ قسٜ اظ

 

9-9-9-9  

 الىتشٍى ثاًَِٗ

secondary electron 

ثب اسهبَ ي٥ٗف  ٞب٢ اِىشطٖٚاِىشطٖٚ سٛؾٍ  ١ا٥ِٚ ثبض٤ى١ 1٘بوكؿبٖدرف  ١اِىشط٣٘ٚ وٝ اظ ٤ه ٕ٘ٛ٘ٝ زض ٘ش٥د

 ٚالا٘ؽ ذبضج قسٜ اؾز. ثٝ ؾُح زض لا١٤

 زاضز. eV 50اِىشطٖٚ ثب٤ٛ٘ٝ َجك سٛافك ا٘طغ٢ وٕشط اظ  -1 ٕٗادآٍس

 [1390: ؾبَ 14095اؾشب٘ساضز ٣ّٔ ا٤طاٖ، قٕبضٜ  ]ٔٙجٕ: ثطٌطفشٝ قسٜ اظ

 

9-9-9-4 

  دس ساػتإ هحَس ػشضٖ اًحشاف هَجٖ ؿىل

Y-deflection waveform 

2 لأخ دطسٛ وبسس٢ )وٝ انُلاحبً ثٝ آٖ اثط )ٔٛخ٣ قىُ( ا٤دبز قسٜ ض٢ٚ ٤ه
CRT وٝ اظ قٛز( ٞٓ ٌفشٝ ٣ٔ

ؾ٥ٍٙبَ اِىشط٣٘ٚ ثب سغ٥٥رط   سجب٤ٗقٛز. حبنُ ٣ٔ زؾشٍبٜ ثٛؾ١ّ٥ ذطٚخ٣ قٙبؾبٌط اِىشط٣٘ٚ آٖ ٔسِٚٝ وطزٖ

 قٛز.٥٘ع ٌفشٝ ٣ٔ "ٖطي٣ ٔسٚلاؾ٥ٖٛ"قٛز. ثٝ ا٤ٗ ضٚـ زٜ ٣ٔ٘كبٖ زاخٟز ٖطي٣ زض 

 [ASTM E986 – 10 ]ٔٙجٕ: ثطٌطفشٝ قسٜ اظ

 

 

                                                 

1- Inelastic 

2- Cathod ray tube 
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9-9-9-1 

  تَسٕاًذاصٓ 

grid size 

 ثطا٢. ثبقس٣ٔزض ثعضٌٕٙب٣٤ ثط حؿت ٥ٔىطٚٔشط  814/1حبنًّطة  ثب ( ثطاثطسٛض٢)ََٛ ٚ ٖطو  سٛض٢ا٘ساظ٠ 

 ٔشط ٥٘بظ اؾز.ؾب٘ش٠635/0٣ ا٘ساظثب  سٛض٢ثٝ ( x 3500ثطاثط ) 3500ٔثبَ ثطا٢ ثعضٌٕٙب٣٤

 ٥ٔىطٚٔشط اؾز. ٥ٔ814/1ساٖ ز٤س ا٘ؿبٖ  - ٗادآٍسٕ

 [ASTM F1372 -12 قسٜ اظ]ٔٙجٕ: ثطٌطفشٝ 

 

9-9-9-6 

 تصَٗش الىتشٍى تشگـتٖ

backscattered electron Image 

ٞب٣٤ اؾرز ورٝ اظ آقىبضؾربظ دطسٛٞرب٢ ثطٌكرش٣ )ٔثربَ: آقىبضؾربظ        ضٚثك٣، ؾ٥ٍٙبَ ٣سه٤ٛط ثبض٤ى١ اِىشطٚ٘

ٔٙف٣( ثٝ زؾز آٔرسٜ   3ؾ٥ٌٛط٢ثب  2سٛض٣ّ٘-، ز٤ٛز حبِز خبٔس، نفح١ وب٘ب٣ِ ٤ب آقىبضؾبظ اٚضٞبضر1ؾٛؾٛظٖ

 اؾز. 
 [1390: ؾبَ 14095اؾشب٘ساضز ٣ّٔ ا٤طاٖ، قٕبضٜ  ]ٔٙجٕ: ثطٌطفشٝ قسٜ اظ 

 

9-9-9-7 

 تصَٗش الىتشٍى ثاًَِٗ

secondary electron image 

قٛز. ا٤ٗ آقىبضؾبظ ثٝ ثب٤ٛ٘ٝ زض٤بفز ٣ٔ ٞب٢ اِىشطٖٚٞب وٝ اظ آقىبضؾبظ ضٚثك٣ ؾ٥ٍٙبَ ثبض٤ى١ اِىشطٖٚسه٤ٛط 

ٖ ٥ٌرطز ٚ ثرٝ   ( ضا ا٘رساظٜ ٔر٣  eV 50)ثب ا٘رطغ٢ وٕشرط اظ    ٝثب٤ٛ٘ ٞب٢ اِىشطَٖٚٛض ٌع٤ٙك٣ قسر   ٞرب٢  اِىشرطٚ

 ثطٌكش٣ حؿبؼ ٥٘ؿز. 

 [1390: ؾبَ 14095اؾشب٘ساضز ٣ّٔ ا٤طاٖ، قٕبضٜ  ]ٔٙجٕ: ثطٌطفشٝ قسٜ اظ

 

 

                                                 

1- Scintillation detector 

2- Everhart-Thornley 

3- Bias 
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9-9-9-8 

 آًال٘ضحجن 

analysis volume 

ٔٛضز اؾشفبزٜ لطاض ٌطفشرٝ اؾرز.    سح٥ُّقسٜ ٚ ثطا٢  ٘كطزازٜوٝ دؽ اظ س٥ِٛس ٚ خصة،  دطسٛ ا٤ىؽحد٣ٕ اظ 

قرٛز )ٔثربَ:   وٙف ث٥بٖ ٔر٣ قسٜ اظ حدٓ ثطٞٓ ٘كطزازٜثٝ نٛضر وؿط ٔكره٣ اظ دطسٛ ا٤ىؽ  سح٥ُّحدٓ 

 زضنس وُ( 95

 [1390: ؾبَ 14095اؾشب٘ساضز ٣ّٔ ا٤طاٖ، قٕبضٜ  ]ٔٙجٕ: ثطٌطفشٝ قسٜ اظ

 

9-9-9-9 

 آصهًَِصاٍٗٔ 

specimen angle 

 اؾز. ثبض٤ى١ اِىشط٣ٕ٘ٚ٘ٛ٘ٝ ثب ٔحٛض  ثط ؾُح ظا١٤ٚ ضاؾشب٢ ٖٕٛز

 [ASTM F1372 -12 ]ٔٙجٕ: ثطٌطفشٝ قسٜ اظ

 

9-9-9-51 

 ؿشاٗظ اػتاًذاسد

standard condition 

 اؾز. و٥ّٛدبؾىبَ 3/101ٚ فكبض  ؾّؿ٥ٛؼٖجبضر اظ زٔب٢ نفط زضخ١  SEMقطا٤ٍ اؾشب٘ساضز آظٖٔٛ 

 [ASTM F1372 -12 ]ٔٙجٕ: ثطٌطفشٝ قسٜ اظ

 

9-9-9-55 

 تش اػاع تَصٗغ اًشطٕ پشتَ اٗىغ ًگاس ع٘ف

energy dispersive x-ray spectroscope 

 ثهٛضر سبث٣ٗ اظ ا٘طغ٢ سبثف اؾز. دطسٛ ا٤ىؽزؾشٍب٣ٞ ثطا٢ س٥٥ٗٗ سغ٥٥طار قسر 

 [1390: ؾبَ 14095اؾشب٘ساضز ٣ّٔ ا٤طاٖ، قٕبضٜ  ]ٔٙجٕ: ثطٌطفشٝ قسٜ اظ
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9-9-9-52 

 تش اػاع تَصٗغ اًشطٕ پشتَ اٗىغٕ ًگاس ع٘ف

energy dispersive x-ray spectroscopy 

قرٛز ٚ ثرطا٢ ؾربذشٗ    ٥ٌط٢ ٣ٔٞب ا٘ساظٜسه فٛسٖٛاؾز وٝ زض آٖ ا٘طغ٢ سه دطسٛ ا٤ىؽ٢ ٍ٘بض ٥َف٣ٖٛ٘ اظ 

 ضٚز.ثط حؿت ا٘طغ٢، ثٝ وبض ٣ٔ دطسٛ ا٤ىؽسٛظ٤ٕ  ٠زٞٙس٤ه ٥ٞؿشٌٛطاْ ز٤د٥شبَ، ٘كبٖ

 [1390: ؾبَ 14095اؾشب٘ساضز ٣ّٔ ا٤طاٖ، قٕبضٜ  ]ٔٙجٕ: ثطٌطفشٝ قسٜ اظ

 

9-9-9-59 

 آًال٘ضػوك 

analysis depth 

٥ٗٗ ٔوٙف وٝ اظ آٖ ٤ه زضنس قٛز. حدٓ ثطٞٓ ٣ٔ ٘كطزازٜ دطسٛ ا٤ىؽحساوثط ٖٕم٣ ضا ٤ٌٛٙس وٝ وٝ اظ آٖ 

 .٣ٔ قٛز ٘كط زازٜزضنس وُ( اظ دطسٛٞب٢ ا٤ىؽ، ثٗس اظ س٥ِٛس ٚ خصة  95)ٔثبَ: 

 [1390: ؾبَ 14095اؾشب٘ساضز ٣ّٔ ا٤طاٖ، قٕبضٜ  ]ٔٙجٕ: ثطٌطفشٝ قسٜ اظ

 

9-9-9-54 

 ه٘ىشٍػىَپٖ الىتشًٍٖ سٍتـٖ

scanning electron microscopy (SEM) 

ضٚثف ؾُح آٖ سٛؾٍ ثبض٤ى١ اِىشط٣٘ٚ ٚ خٕٕ آٚض٢ ٚ ثطضؾ٣ ضٚـ س٥ِٛس سهب٤ٚط ثعضٌٕٙب٣٤ قسٜ اظ ٕ٘ٛ٘ٝ ثب 

 اؾز. ٜ قس٠ حبنُ اظ آٖٞب٢ دطاوٙس اِىشطٖٚ

 زاضز. ٘ب٘ٛٔشط 10سب ٘ب٘ٛٔشط  1ٚيٛح فًب٣٤  SEMضٚـ  -1 ٗادآٍسٕ

 ز.ق٣ٛ اؾشفبزٜ ٣ٔق٥ٕ٥ب٤ اظ ا٤ٗ ضٚـ ثطا٢ س٥٥ٗٗ ا٘ساظٜ، قىُ، ؾبذشبض ٚ زض ثطذ٣ ٔٛاضز اَلاٖبر سطو٥ت -2 ٗادآٍسٕ

ٔب٘ٙس آقىبضؾبظ سفى٥ه ا٘طغ٢ وٝ أىبٖ س٥٥ٗٗ سطو٥ت ق٥ٕ٥ب٣٤ ثرب ٚيرٛح    ٣آقىبضؾبظٞب٤اظ ٞب، زض ثطذ٣ اظ ضٚـ -3 ٗادآٍسٕ

٥ٌط٢ ٚ ورط٘ف ثّرٛض ضا ا٘رساظٜ    وٝ خٟز 1قسٜدطاوٙسٜاِىشط٣٘ٚ دطاق٣ دؽوٙس، آقىبضؾبظٞب٢ ضا فطاٞٓ ٣ٔ ٘ب٘ٛٔشط 1فًب٣٤ ظ٤ط 

 قٛز.اؾشفبزٜ ٣ٔ ،ثب سجب٤ٗ اس٣ٕ ثطٌكش٣ ٥ٌط٘س ٚ آقىبضؾبظٞب٣ٔ٢

 [BSI-PAS 136: 2007 ]ٔٙجٕ: ثطٌطفشٝ قسٜ اظ

 

                                                 

1- Electron backscattered diffraction detectors 
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 ه٘ىشٍػىَپٖ الىتشًٍٖ ػثَسٕ ٍاطگاى هشتَط تِ سٍؽ -9-9-4

9-9-4-5 

 ساًؾ آصهًَِ

specimen drift 

 اِىشط٤ى٣ ضا ٤ٌٛٙس. ٌطٔب٣٤ ٚحطوز غ٥طَٕٔٗٛ ٕ٘ٛ٘ٝ زض اثط ٞط ٤ه اظ ٖٛأُ ٔىب٥٘ى٣، 

 [ISO 29301:2010 قسٜ اظ ]ٔٙجٕ: ثطٌطفشٝ

 

9-9-4-2 

 اًغثاق هحَسٕ

alignment 

ثٝ ٔٙٓٛض اُ٘جبق  2ٔىب٥٘ى٣ س٥ٓٙٓ ٞب٢د٥چٚ/ ٤ب  1ثبض٤ى١ اِىشط٣٘ٚٞب٢  وٙٙسٜ ذٓاٖٕب٣ِ وٝ زض آٖ اظ  ٔدٕٖٛٝ

 قٛز.اؾشفبزٜ ٣ٔ ٔحٛض ادش٥ى٣ ثب ثبض٤ى١ اِىشط٣٘ٚ

 [ISO 29301:2010 ]ٔٙجٕ: ثطٌطفشٝ قسٜ اظ

 

9-9-4-9 

  Rhklتشداس 

vector Rhkl           

 ٤بثس.أشساز ٣ٔ hklثطزاض٢ اؾز زض نفح١ ا٢ٍِٛ دطاـ وٝ اظ ٔطوع سب ٘م١ُ سه٤ٛط قس٠ نفح١ 

 [ISO 25498: 2010]ٔٙجٕ: ثطٌطفشٝ قسٜ اظ  

 

9-9-4-4 

  ghklهؼىَع ؿثىٔ تشداس 

reciprocal vector ghkl 

 نفحٝ زض قجىٝ ٔٗىٛؼ اؾز. قبذم

                                                 

1- Deflectors 

2- Mechanical knobs 
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ضاثُٝ ( dhkl) ا٢ث٥ٗ نفحٝ ١آٖ ثب ٔٗىٛؼ فبنّ ٠( ٖٕٛز ثٛزٜ ٚ ا٘ساظhkl) ثّٛض٢ثط نفحٝ  ghklٔٗىٛؼ قجى١ ثطزاض  - ٗادآٍسٕ

 زاضز.

 [ISO 25498: 2010 ]ٔٙجٕ: ثطٌطفشٝ قسٜ اظ 

 

9-9-4-1 

 پشاؽ الىتشًٍٖ ػغح اًتخاتٖ

selected area electron diffraction (SAED) 

ٝ   ثرك٣ اظ اؾز وٝ زض آٖ ؾبذشبض ثّٛض٢ ٖجٛض٢  اِىشط٣٘ٚ ٣ضٚق٣ زض ٥ٔىطٚؾىٛد ٝ  ؾرُح ٤ره ٕ٘ٛ٘ر ثرٝ   ور

  .٥ٌطزٔٛضز آظٔب٤ف لطاض ٣ٔ ،اؾزقسٜ  ةا٘شرب ٤1ه ضٚظ٘ٝ ٚؾ٥ّٝ

 ز.ٌطفشٝ قسٜ اؾ ISO 13794:1999ا٤ٗ سٗط٤ف اظ اؾشب٘ساضز  -ٗادآٍسٕ

 [1390: ؾبَ 14095اؾشب٘ساضز ٣ّٔ ا٤طاٖ، قٕبضٜ  ]ٔٙجٕ: ثطٌطفشٝ قسٜ اظ

 

9-9-4-6 

 پٌْإ ه٘ذاى افمٖ

horizontal field width  

“HFW” 

 وبُٔ زض ضاؾشب٢ افم٣ ٤ه سه٤ٛط ثعضٌٕٙب٣٤ قسٜ اؾز. دٟٙب٢ََٛ ان٣ِّ ٔشٙبؾت ثب 

 [ISO 29301:2010 ]ٔٙجٕ: ثطٌطفشٝ قسٜ اظ 

 

9-9-4-7 

 پزٗشٕ پ٘ىؼلتفى٘ه

pixel resolution 

 اؾز.ٞب٢ سه٤ٛط ثٝ ٚاحس ََٛ زض آقىبضؾبظ ٘ؿجز سٗساز د٥ىؿُ

 [ISO 29301: 2010]ٔٙجٕ: ثطٌطفشٝ قسٜ اظ 

 

9-9-4-8 

                                                 

1- Aperture 
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 TEM تاسٗه ه٘ذاىحالت 

dark-field TEM 

ثٝ َٛض ثبض٤ى١ اِىشط٣٘ٚ ثٝ ٚؾ١ّ٥ آٖ اؾز وٝ ٣َ آٖ  ٤ٛطثطزاض٢هٚ س TEM اِىشط٣٘ٚ ٥ٔ٣ىطٚؾىٛدضٚق٣ زض 

ا٤رٗ أرٛاج ثرب     .قرٛز ٔر٣  ُسكى٥ ٤بفشٝ دطاـ دطسٛٞب٤ٛ٢ط فمٍ ثٝ ٚؾ٥ّٝ هوٙس ٚ سٛض ٣ٔجاظ ٕ٘ٛ٘ٝ ٖ ٓٔؿشم٥

  .قٛ٘س٣ٔ سفى٥ه وب٣٘ٛ٘ نفحٝ دكز زضاؾشفبزٜ اظ ضٚظ٘ٝ ق٥ئ٣ 

ا زض دكرز نرفحٝ   عزضثرف ٞرب٣٤ ٔدر   ٓ اظ ٕ٘ٛ٘ٝ ضأؿشم٥ٖجٛض٢ ثٝ نٛضر ٞب٢  اِىشطٖٚ، ٞب٢ ثّٛض٢ ٕ٘ٛ٘ٝ ثرف -5 ٗادآٍسٕ

سٛاٖ ثرف ٞب٢ زِرٛاٜ اظ دطسٛٞب٢ ا٘ٗىربؼ ٤بفشرٝ   ثب لطاض زازٖ ضٚظ٘ٝ ق٥ئ٣ زض دكز نفحٝ وب٣٘ٛ٘ ٣ٔ. سٙوٙوب٣٘ٛ٘ دطاوٙسٜ ٣ٔ

٤ٛطثطزاض٢ هر ٚ س ةقرٛز ضا ا٘شررب  اِىشطٖٚ ٔر٣  دطاوٙس٣ٌسٛاٖ لؿٕز ٞب٣٤ اظ ٕ٘ٛ٘ٝ وٝ ثبٖث وطز زض ٘ش٥دٝ فمٍ ٣ٔ  ةضا ا٘شرب

اظ ٕ٘ٛ٘رٝ   ٣قر ٞطخب٣٤ وٝ ٥ٞچ دطازض  ٤ٛطهس، جبقس٘٘كسٜ  دطاوٙسٜدطسٛ  ُقبٔسٛؾٍ ضٚظ١٘ ٔطثَٛٝ  قسٜ ا٘شربة ةاٌط ثبظسب وطز.

ا٤رٗ   .اَرلاق ٔر٣ قرٛز    "سبض٤ه ٥ٔساٖ" بثٝ آٖ انُلاح ِصا قسٜ ٚسبض٤ه ْبٞط   رٛضهثلّّٝ ا٘شربة قسٜ ٚخٛز ٘ساقشٝ ثبقس، زض 

ثساٖ ٔٗٙبؾز وٝ زض ٞط لؿٕز اظ ٕ٘ٛ٘ٝ وٝ ثرف ثّٛض٢ ٚخٛز زاقشٝ ثبقس دطاـ اسفربق افشربزٜ ٚ زض ٘ش٥درٝ زض ظ٥ٔٙر١ سبض٤ره      

 ز.قٛ نٛضر ضٚقٗ ٔكبٞسٜ ٣ٔ ثٝ

-خٟرز زض ٕ٘ٛ٘رٝ   ٖ وح وطزٖوٝ أىب ٞؿشٙس ٞب٣٤ثٝ ٍٟ٘ساض٘سٜ ٕ٘ٛ٘ٝ عاغّت ٔدٟ TEM ١زؾشٍبٜ ٞب٢ د٥كطفش  -2 ٗادآٍسٕ

ثرٝ َرٛض ٔثربَ    ٔٛخت دطاوٙس٣ٌ ٚ ثبظسبة )وٝ  ا٢ . ثبض٤ىٝزٞسآٚضزٖ قطا٤ٍ دطاـ ٤ٚػٜ ثٝ وبضثط ٣ٔ ٞب٢ ٔرشّف ضا ثطا٢ ثسؾز

درطاـ   دطسٛ ة٤ٛط اظ َط٤ك ا٘شربها٤ٗ س. قٛز٣ٔ ٤ٛط ٥ٔساٖ سبض٤ههس ُٔٛخت سكى٥ قٛزا٢ ثّٛض٢ ٣ٔ زض ٕ٘ٛ٘ٝ( 1ياثط ةثبظسب

 .قٛز٣ٔ سكى٥ُ وب٣٘ٛ٘ ٖسؾ٣ ق٥ئ٣ ٤ٚ١ػٜ اظ ٥ٔبٖ ضٚظ٘ٝ ق٥ئ٣ زض دكز نفح ٤١بفش

ا٤ٗ  ٖسز اس٣ٕ ٕ٘ٛ٘ٝ ثؿ٥بض حؿبؼ ثٛزٜ وٝ رثٝ سغ٥٥طا( HAADF) 2ثبلا ١سبض٤ه حّم٢ٛ ظا٤ٚ ٤ٛطثطزاض٢ ٥ٔساٖهس -9 ٗادآٍسٕ

زض ٘بِِ٘ٛٛرٝ ٞرب ٚ    راعٔف٥س٢ زضٔٛضز حًرٛض فّر   رب٤ٚط اَلاٖبها٤ٗ س .قٛز٣ٔ 3ٖٙهط٢ ٚيٛحثب ب٤ٚط هس ُٔٛخت سكى٥ ٔٛيٛٔ

ٝ ٤ب دب٤ٝ وبسب٥ِؿز ثبقرس  قىُ ث٣ه وبسب٥ِؿز زض وطثٗ چوٛ رحش٣ ٚلش٣ وٝ شضا ،ٞب٢ وبسب٥ِؿزثبل٥ٕب٘سٜ . زض زٞرس ٔر٣  ، ضا اضائر

ٗ هزض حبِز س، اض٢ اؾشفبزٜ ٘كٛز٤ٛطثطزهاٌط اظ ا٤ٗ ضٚـ س وٝ حب٣ِ  ُه وبسب٥ِؿرز غ٥طلبثر  چر وٛ رشضا ،٤ٛطثطزاض٢ ٥ٔساٖ ضٚقر

  ذٛاٞٙس ثٛز.  ض٤ٚز 

 ثب انلاحبر[ 1390: ؾبَ 14095]ٔٙجٕ: ثطٌطفشٝ قسٜ اظاؾشب٘ساضز ٣ّٔ ا٤طاٖ، قٕبضٜ 

 

  

                                                 

1-  Bragg reflection  

2-  High angle annular dark  field imaging  

3-  Z-contrast image  
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9-9-4-9 

 TEM سٍؿي ه٘ذاىحالت 

bright-field TEM 

ثرٝ َرٛض   ثبض٤ىر١ اِىشطٚ٘ر٣   اظ آٖ اؾز ورٝ َر٣ آٖ    ٤ٛطثطزاض٢هٚ س TEM اِىشط٣٘ٚ ٥ٔ٣ىطٚؾىٛدضٚق٣ زض 

ثرب اؾرشفبزٜ اظ   ا٤رٗ دطسرٛ    .قٛز٣ٔ ُٛض٢ سكى٥جٖ دطس٤ٛٛط فمٍ ثٝ ٚؾ٥ّٝ هوٙس ٚ سٛض ٣ٔجاظ ٕ٘ٛ٘ٝ ٖ ٓٔؿشم٥

 قٛز.خسا ٣ٔق٥ئ٣ زض دكز نفحٝ وب٣٘ٛ٘  ضٚظ٘ٝ

ٗ   ٤٢ب زاضا٢ ٖسز اس٣ٕ ث٥كشط ٚ سطٓلؿٕز ٞب٣٤ اظ ٕ٘ٛ٘ٝ وٝ ير٥ ،ثٝ َٛض و٣ّ  -5 ٗادآٍسٕ سرط  س٥رطٜ  ،ٞؿشٙس زض ظ٥ٔٙرٝ ضٚقر

يربٔز ث٥كرشط زض   زاضا٢ٔٙبَك  .قٛزاِىشطٖٚ زض ٕ٘ٛ٘ٝ ا٤دبز ٣ٔ صةٚيٛح زض اثط ٥ٌطافشبزٖ ٚ خ ،زض ا٤ٗ حبِز ٘س.قْٛبٞط ٣ٔ

ٝ  ٛضجٔٙبَم٣ اظ ٕ٘ٛ٘ٝ وٝ زض ٔٗطو ٖ قسٜ ٚ ٥٘ع س٥طٜ ز٤سٜ ،ٖسز اس٣ٕ ث٥كشط زاضا٢ ٕ٘ٛ٘ٝ ٤ب ٔٙبَك ضٚقرٗ   ا٘رس، دطسٛ لطاض ٍ٘طفشر

 .قٛزاَلاق ٣ٔ "٥ٔساٖ ضٚقٗ" بًثٝ آٖ انُلاح وٝ قٛ٘س٣ْٔبٞط 

 ثب انلاحبر[ 1390: ؾبَ 14095]ٔٙجٕ: ثطٌطفشٝ قسٜ اظاؾشب٘ساضز ٣ّٔ ا٤طاٖ، قٕبضٜ 

 

9-9-4-51 

 (uvwؿاخص )

index (uvw) 

 اؾز. 1قبذم نفح١ ثّٛض٢ زض قجى١ ٔٗىٛؼ

 اؾز. [uvw]( ٔٛاظ٢ ثب خٟز uvwنفح١ )ثطزاض ٖٕٛز ثط  - ٗادآٍسٕ

 [ISO 25498: 2010]ٔٙجٕ: ثطٌطفشٝ قسٜ اظ 

 

9-9-4-55 

 اػتاًذاسد تشاًگ٘ختِؿشاٗظ 

standard excitation condition 

 ٖسؾ٣ ق٥ئ٣ ثطا٢ ٕ٘ٛ٘ٝ اؾز. ١ثطا٥ٍ٘رشاِىشط٤ى٣ خٟز خط٤بٖ  ١قطا٤ٍ ث٥ٟٙ

 قٛز.سٛؾٍ ؾبظ٘س٠ آٖ س٥٥ٗٗ ٣ٔا٤ٗ قطا٤ٍ زض ٥ٔىطٚؾىٛح اِىشط٣٘ٚ ٖجٛض٢  -1 ٗادآٍسٕ

 اؾز.اؾ٥ٖٛ قطا٤ٍ سىطاضدص٤ط، لبثُ وب٥ِجط زضقٛز ٚ ٥ٌط٢ ٣ٔثعضٌٕٙب٣٤ سه٤ٛط ٕٔٗٛلا زض ا٤ٗ قطا٤ٍ ا٘ساظٜ -2 ٗادآٍسٕ

 [ISO 29301: 2010 ]ٔٙجٕ: ثطٌطفشٝ قسٜ اظ

                                                 

1- Reciprocal lattice 
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9-9-4-52 

 ًگاسٕ اتلاف اًشطٕ الىتشٍى ع٘ف

electron energy loss spectroscopy  

"EELS" 

ٞب زض ٖجٛض اظ ٤ه ٔربزٜ،  اِىشطٖٚ 1٘بوكؿبٖ دطاوٙس٣ٌضٚق٣ وٝ زض آٖ ٥َف سٛظ٤ٕ ا٘طغ٢ اِىشط٣٘ٚ حبنُ اظ 

 ٥ٌطز.سطو٥ت ق٥ٕ٥ب٣٤ ٚ ؾبذشبض ٔبزٜ ٔٛضز اؾشفبزٜ لطاض ٣ٔ ٤بث٣ٔكرهٝثطا٢ 

٥ٞspجط٤س٢  ٞب٢ اِىشطٖٚثطا٢ ٔٛاز وطث٣ٙ خٟز سكر٥م ٚخٛز  - ٗادآٍسٕ
2  ٚsp

 قٛز.اؾشفبزٜ ٣ٔ 3

 [BSI-PAS 136: 2007 ]ٔٙجٕ: ثطٌطفشٝ قسٜ اظ

 

9-9-4-59 

 (dhkl) إت٘ي صفحِ ٔفاصل

interplanar spacing 

 .٤ٌٛٙسضا ٣ٔ ٤ىؿبٖ( قبذم)ثب  ثّٛض٢ ١نفح زٖٕٚٛز ٥ٔبٖ  ١فبنّ

 [ISO 25498: 2010]ٔٙجٕ: ثطٌطفشٝ قسٜ اظ 

 

9-9-4-54 

  هٌغمِهحَس 

zone axis 

ورٝ ٍٕٞر٣ زض   اؾرز  ( h1, k1, l1… hn, kn, lnثطا٢ زؾشٝ نفحبر )لبثُ سٗط٤ف  [u, v, w] ثّٛضقٙبؾ٣خٟز 

 .وٙٙسنسق ٣ٔ( hu+kv+lw=0) ُٔٙمٝلبٖ٘ٛ 

 [ISO 29301: 2010 ]ٔٙجٕ: ثطٌطفشٝ قسٜ اظ

 

9-9-4-51 

  اپت٘ىٖهحَس 

optical axis 

 .وٙسذٍ ٔؿشم٣ٕ٥ وٝ اظ ٔطوع سمبضٖ ٥ٔساٖ ٔغٙب٥َؿ٣ ٤ه ٖسؾ٣ ٖجٛض ٣ٔ

                                                 

1- Inelastic 
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 [ISO 29301:2010 ثطٌطفشٝ قسٜ اظ]ٔٙجٕ: 

 

9-9-4-56 

 ٕالىتشًٍٖ ػثَس ه٘ىشٍػىَپٖ

transmission electron microscopy (TEM) 

 آٖٖجٛض ٤ه ثبض٤ى١ اِىشط٣٘ٚ اظ  ثٝ ٚؾ١ّ٥ اظ ٕ٘ٛ٘ٝ ٞب٢ دطاـضٚق٣ ثطا٢ س٥ِٛس سهب٤ٚط ثعضٌٕٙب٣٤ قسٜ ٤ب اٍِٛ

 اؾز.

خع٥٤ربر   ثطا٢ ثطضؾر٣ )٘ب٘ٛٔشط  200سب ٘ب٘ٛٔشط  100ٞب٣٤ ثب يربٔز وٕشط اظ ثٝ َٛض َٕٔٗٛ ثٝ ٕ٘ٛ٘ٝ TEM ضٚـ -1 ٗادآٍسٕ

 .وطز اؾشفبزٜٞب٢ ثبلاسط ا٘طغ٢ ٤س اظسط ثبٞب٢ ير٥ٕٓ٘ٛ٘ٝ ثطا٢ ثطضؾ٣زاذُ ٕ٘ٛ٘ٝ( ٥٘بظ زاضز. 

اؾرشفبزٜ  ٘ب٘ٛٔشط  2/0اظ  ث٥كشطٞب٢ ٞب٢ اس٣ٕ ثب ٚيٛحثطا٢ سه٤ٛطثطزاض٢ نفحبر قجىٝ ٚ ضز٤ف TEMسٛاٖ اظ ٣ٔ -2 ٗادآٍسٕ

 .وطز

ٍ٘بض وبٞف ا٘طغ٢ اِىشطٖٚ ثرب أىربٖ    ٞب اظ آقىبضؾبظٞب٢ ايبف٣ ٔب٘ٙس آقىبضؾبظ سفى٥ه ا٘طغ٢ ٤ب ٥َفثطذ٣ ضٚـ -3 ٗادآٍسٕ

 وٙٙس.اؾشفبزٜ ٣ٔ ٘ب٘ٛٔشط 10ث٥كشط اظ  ٕ٘ب٤ف سطو٥ت ق٥ٕ٥ب٣٤ ثب ٚيٛح

 [BSI-PAS 136: 2007 ]ٔٙجٕ: ثطٌطفشٝ قسٜ اظ

 

9-9-4-57 

 اصٕ تصَٗشػ ًاٍاضح

defocus 

قطا٤ٍ وب٣٘ٛ٘ ادش٥ى٣ وٝ زض آٖ ٔىبٖ ٖٕٛز٢ ٕ٘ٛ٘ٝ زض ضاؾشب٢ ٖٕٛز٢ ثرط نرفح١ ٖسؾر٣ قر٥ئ٣ ُٔٙجرك      

 ٥٘ؿز.

 [ISO 29301: 2010]ٔٙجٕ: ثطٌطفشٝ قسٜ اظ 
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  ه٘ىشٍػىَپٖ ً٘شٍٕ اتوٖ ٍاطگاى هشتَط تِ سٍؽ -9-9-1

9-9-1-5 

 حالت تواػٖ

contact mode 

ا٢ سٙٓر٥ٓ  ٌٛ٘ٝٝ ٤ب اضسفبٔ ٕ٘ٛ٘ٝ ث دطٚة ١فبنّزض آٖ وٝ اؾز ٥٘ط٢ٚ اس٣ٕ  ٥ٔىطٚؾىٛح زؾشٍب٣ٞ زضحبِش٣ 

 .ثٕب٘سٚ ٕ٘ٛ٘ٝ ثبثز  دطٚةقٛز وٝ ٥٘ط٢ٚ زافٗٝ ٥ٔبٖ ٣ٔ

 [BSI-PAS 136: 2007 ]ٔٙجٕ: ثطٌطفشٝ قسٜ اظ

 

9-9-1-2 

 حالت غ٘شتواػٖ

non-contact mode 

حطورز  ٕ٘ٛ٘رٝ  ثربلا٢ ؾرُح   ا٢ ٌٛ٘ٝٝ ث دطٚةزض آٖ وٝ  اؾز ٥٘ط٢ٚ اس٣ٕ ٥ٔىطٚؾىٛح زؾشٍب٣ٞ زضحبِش٣ 

 .قٛز٣ٔٚاضز ٕ٘ٛ٘ٝ  ثٝاِىشطٚاؾشبس٥ى٣ ٥٘ط٢ٚ خبشثٝ  ،وٝ زض اثط آٖ وٙس٣ٔ

 [BSI-PAS 136: 2007 ]ٔٙجٕ: ثطٌطفشٝ قسٜ اظ

 

9-9-1-9 

 حالت هتٌاٍب 

intermittent mode 

ٝ ثر  (Z) ٖٕرٛز  زض ضاؾرشب٢  درطٚة  خرب٣٤  خبثٝوٝ زض آٖ  اؾز ٥٘ط٢ٚ اس٣ٕ ٥ٔىطٚؾىٛح زؾشٍب٣ٞ زضحبِش٣ 

 َٛض ٔشٙبٚة ثب ؾُح ٕ٘ٛ٘ٝ سٕبؼ زاقشٝ ثبقس.ٝ ث دطٚةوٝ ٘ٛن اؾز ا٢ ٌٛ٘ٝٝ ثٚ نٛضر ؾ٥ٙٛؾ٣ 

 [BSI-PAS 136: 2007 ]ٔٙجٕ: ثطٌطفشٝ قسٜ اظ

 

9-9-1-4 

 فاصلِ -هٌحٌٖ ً٘شٍ

force-distance curve 

 خب٣٤ خبث٥ٌٝط٢ وٝ ثب ا٘ساظٜاؾز  ٥ٔىطٚؾىٛد٣ ٥٘ط٢ٚ اس٣ٕ حبنُ اظ خب٣٤ خبثٝ ثط حؿتٔمبز٤ط ٥٘طٚ ٔٙح٣ٙ 

 ثسؾز آٔسٜ اؾز. (x,y) ٘مُٝ اظ ؾُح ٕ٘ٛ٘ٝ ثطا٢ ٞط دطٚةؾٛظٖ 

 [BSI-PAS 136: 2007 ]ٔٙجٕ: ثطٌطفشٝ قسٜ اظ
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9-9-1-1 

 ً٘شٍٕ اتوٖ ٖه٘ىشٍػىَپ

AFM) )atomic force microscopy  

ٖ ٤ه دطزاظـ سه٤ٛط٢ ٥٘ط٢ٚ ٘بق٣ اظ ا٘حطاف  ٚ ـقٕبض، ضٚثف ٔىب٥٘ى٣ ثبسه٤ٛطثطزاض٢ ؾُٛح  ضٚـ  ؾرٛظ

 اؾز. ثب ؾُح ٔدبٚض٥ٔىطٚٔشط٢ 

 [BSI-PAS 136: 2007 ]ٔٙجٕ: ثطٌطفشٝ قسٜ اظ

 

9-9-1-6 

 پشٍبًاًَ

nanoprobe 

 اؾز. ٥ٌط٢ ٘ب٘ٛٔم٥بؼٔٛضز اؾشفبزٜ زض ا٘ساظٜ دطٚة

 [BSI-PAS 136: 2007 ]ٔٙجٕ: ثطٌطفشٝ قسٜ اظ

 

 ٗاتٖ هـخصِّإ ػاٗش سٍؽ سٍؽ ٍاطگاى هشتَط تِ -9-9-6

9-9-6-5 

 هتشاپ٘فاًٖ

epiphaniometer 

ثربض   ١اظ ٔحفٓر  ٞٛاؾُُاؾز. زض ا٤ٗ زؾشٍبٜ  1ٞٛاؾ٥ٌُُط٢ ٔؿشم٥ٓ ٔؿبحز ؾُح ٤ه زؾشٍب٣ٞ ثطا٢ ا٘ساظٜ

سكى٥ُ ٚ ثٝ ؾُح شضار ٔشهرُ   2ٞب٢ ؾطة، اظ ٤ه ٔٙجٕ آوش٥ٙ٥ْٛوٝ زض آٖ ا٤عٚسٛح وٙس٣ٖٔجٛض  اِىشط٤ى٣

٥ٌرط٢ قرسٜ ٚ   قٛ٘س. ٥ٔعاٖ ضاز٤ٛاوش٤ٛ٥شٝ ا٘رساظٜ وٙٙسٜ ٔٙشمُ ٤٣ٔه ف٥ّشط خٕٕ ثٝاظ ٤ه ِِٛٝ  ؾذؽقسٜ ٚ 

 ٔمساض آٖ ٔشٙبؾت ثب ٔؿبحز ؾُح شضٜ اؾز.

 [BSI-PAS 136: 2007 ]ٔٙجٕ: ثطٌطفشٝ قسٜ اظ

 

 

 

                                                 

1- Aerosol 

2- Actinium 
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9-9-6-2 

 سٍتؾ تحشن  تارسات گ٘شٕ اًذاصُ

scanning mobility particle sizing (SMPS) 

ثرط   شضارٚ خساؾبظ٢  ثبضزاض ٕ٘ٛزٖثب اضائٝ ا٘ساظٜ ٚ سٗساز آٟ٘ب ثٗس اظ  ثطا٢ سكر٥م ٚ قٕبضـ ٘ب٘ٛشضار ضٚق٣

 3 ثرب ا٘رساظٜ   ٣ٞب٤ٞٛاؾ٥ٌُُط٢ اؾبؼ سحطوكبٖ زض ح٥ٗ ٖجٛض اظ ٥ٔبٖ زٚ اِىشطٚز اؾز. ا٤ٗ ضٚـ سٛاٖ ا٘ساظٜ

 ضا زاضز. ٘ب٘ٛٔشط 800 سب ٘ب٘ٛٔشط 

 قٛز.ٖجبضر لُط سحطن شضار ث٥بٖ ٣ٔسٛظ٤ٕ ا٘ساظٜ ثب  - ٗادآٍسٕ

 [BSI-PAS 136: 2007 ]ٔٙجٕ: ثطٌطفشٝ قسٜ اظ

 

9-9-6-9 

 سدٗاتٖ ًاًَرسات تحل٘ل

nanoparticle tracking analysis 

٥ِعض ٔٛضز سبثف لرطاض ٌطفشرٝ ٚ    ٚؾ١ّ٥ثٝ ، س٥ّٗمٝزضٖٚ ٤ه  ثطا٣٘ٚوٝ زض آٖ شضار زاضا٢ حطوز اؾز  ضٚق٣

 ٥ٌطز.٥ٌط٢ اثٗبز٢ آٟ٘ب ٔٛضز اؾشفبزٜ لطاض ٣ٔا٘ساظٜ ثٝ ٔٙٓٛضسغ٥٥ط ٔىبٖ شضار 

 [ISO-TS 80004-6: 2013 ]ٔٙجٕ: ثطٌطفشٝ قسٜ اظ

 

9-9-6-4 

 پشاؽ ًَتشًٍٖ

neutron diffraction 

 ثطا٢ س٥٥ٗٗ ؾبذشبض اس٣ٕ ٚ ٤ب ٔغٙب٥َؿ٣ ٔبزٜ اؾز. 1وكؿبٖاؾشفبزٜ اظ دطاـ ٘ٛسط٣٘ٚ 

ثطذٛضز٢ زاض٘س. ا٢ٍِٛ دطاـ ا٤دبز قرسٜ اَلاٖربس٣    ٢ٞب٢ دطسٛ ثب ٘ٛسطٖٚ ا٘طغ٢ ثطاثطسمط٤جبً  ،ٞب٢ دطاـ ٤بفشٝ ٘ٛسطٖٚ – ٗادآٍسٕ

 وٙس.اظ ؾبذشبض ٔبزٜ ضا اضائٝ ٣ٔ

 [ISO-TS 80004-6: 2013 ]ٔٙجٕ: ثطٌطفشٝ قسٜ اظ

 

 

 

                                                 

1- Elastic 
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9-9-6-1 

 ًَٖٗ هتوشوض پشتَ

focused ion beam (FIB) 

خٟز ا٤دربز ٤ره ٘مُرٝ     ،ٞب٢ اِىشطٚاؾشبس٥ها٢ اظ ٖسؾ٣زؾشٝ دطس٣٤ٛ اظ ٤ٟٛ٘ب )ٕٔٗٛلا ٌب٥ِٓ( وٝ ثب ٖجٛض اظ

 ٔشٕطوع قسٜ اؾز. ٘ٛضا٣٘ ض٢ٚ ؾُح

ب وٙسٖ ٔبزٜ اظ ؾُح ض٢ٚ آٖ ٤ه اٍِٛ ا٤دبز وٙرس. ثرب ا٤رٗ ضٚـ،    ثسٛا٘س ؾُح ٕ٘ٛ٘ٝ ضا ضٚثف ٕ٘ٛزٜ ٚ ٣ٔا٤ٗ دطسٛ  -1 ٗادآٍسٕ

 زض ٔم٥بؼ ٘ب٘ٛ لبثُ زؾش٥بث٣ اؾز.دص٤ط٢ سفى٥ه

 قٛز.ٞٓ قٙبذشٝ ٣ٔ 1دطسٛ ٣٘ٛ٤ ٔشٕطوع وبض٢ثٝ ٖٙٛاٖ آؾ٥ب ضٚـ ا٤ٗ -2 ٗادآٍسٕ

 اؾشفبزٜ ٕ٘ٛز.آٚض٢ ٚ خٕٕ لبثُؾُح ثطا٢ ا٤دبز سه٤ٛط ؾُح ٕ٘ٛ٘ٝ  ٞب٢ ثب٤ٛ٘ٝٞب ٤ب ٤ٖٖٛاِىشطٚ -3 ٗادآٍسٕ

 [BSI-PAS 136: 2007 ]ٔٙجٕ: ثطٌطفشٝ قسٜ اظ

 

9-9-6-6 

 صاٍِٗ وَچه پشتَ اٗىغ پشاوٌذگٖ

small angle x-ray scattering (SAXS) 

 دطسر٢ٛ  ثٝ ظا٤ٚٝ٘ؿجز  ا٤ىؽ زض ظٚا٤ب٢ وٛچه دطسٛآٖ دطاوٙس٣ٌ  زضوٝ  دطسٛ ا٤ىؽ ٣ ثٝ وٕهسح٥ّّضٚـ 

 اؾشفبزٜ ٣ٔ قٛز.ٔٛاز  ٢ؾبذشبض س٥٥ٗٗ اَلاٖبر ثطا٢ ٚ اظ ا٤ٗ ضٚـ اسفبق ٣ٔ افشس٢ ٖجٛض

ا٘دٕربز   خجٟر١ زض دكرز   2قرسٜ ثّٛض٘ب٘ٛ ظ٣٘ ٚ ضقرس إِربؼ  خٛا٘ٝ ٞب٢زازٜثسؾز آٚضزٖ  ثطا٢سٛاٖ اظ ا٤ٗ ضٚـ ٣ٔ - ٗادآٍسٕ

 .وطزاؾشفبزٜ 

 [BSI-PAS 136: 2007 ]ٔٙجٕ: ثطٌطفشٝ قسٜ اظ

 

 

 

 

 

 

                                                 

1- FIB milling 

2- Ultrananocrystallined 
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9-9-6-7 

 ًَتشًٍٖ صاٍِٗ وَچه پشاوٌذگٖ

small angle neutron scattering (SANS) 

 ثطذٛضز دطسٛ اؾز. ٞب زض ظٚا٤ب٢ وٛچه ٘ؿجز ثٝ ظا٤ٚٝ٘ٛسطٖٚ دطاوٙس٥ٌ٣ٌط٢ ضٚق٣ ثطا٢ ا٘ساظٜ

 ٤ه شضٜ اؾشفبزٜ قٛز.ؾُح ض٢ٚ  ٞب٢ خصة قسٜٔىب٣٘ ٌٛ٘ٝ ٗ ضٚـ ٕٔىٗ اؾز ثطا٢ س٥٥ٗٗ سٛظ٤ٕا٤ - ٗادآٍسٕ

 [BSI-PAS 136: 2007 ]ٔٙجٕ: ثطٌطفشٝ قسٜ اظ

 

9-9-6-8 

 تحشن الىتشٍوَچٖ

electrophoretic mobility 

 اِىشط٤ى٣ اٖٕبَ قسٜ اؾز.ٖجبضر اظ ؾطٖز اِىشطٚوٛچ٣ سمؿ٥ٓ ثط لسضر ٥ٔساٖ 

اٌط ٤ه شضٜ ثٝ ؾٕز دشب٘ؿ٥ُ وٕشط حطوز وٙس، سحطن اِىشطٚوٛچ٣ آٖ ٔثجز ٚ زض حبِز ثطٖىؽ، ٔٙف٣ ذٛاٞس  -1 ٗادآٍسٕ

 ثٛز.

  دص٤ط٢ اِىشطٚوٛچ٣ ثب ٚاحس سحطن -2 ٗادآٍسٕ

 
 قٛز.ث٥بٖ ٣ٔ 

 [ISO-TS 80004-6: 2013]ٔٙجٕ: ثطٌطفشٝ قسٜ اظ 

 

9-9-6-9 

 إ الىتشٗىِٖتـخ٘ص هٌغم

electrical zone sensing 

٥ٌط٢ افز خط٤بٖ اِىشط٤ىر٣ زض ٍٞٙرب٣ٔ   ٥ٌط٢ شضار زض اِىشط٥ِٚز ثب ا٘ساظٜضٚق٣ اؾز ثطا٢ قٕبضـ ٚ ا٘ساظٜ

 وٙس.اظ زض٤چ١ ث٥ٗ زٚ ٔحفٓٝ ٖجٛض ٣ٔ وٝ شضٜ

 افز خط٤بٖ ٔشٙبؾت ثب حدٓ شضٜ اؾز. -1 ٗادآٍسٕ

 قٛ٘س.  ٥ٔساٖ اِىشط٤ى٣ ثٝ ؾٕز زض٤چٝ ٞسا٤ز ٣ٔٚؾ١ّ٥ فكبض ٚ ٤ب  شضار ثٝ -2 ٗادآٍسٕ

 ٥ٌط٢ ٘ب٘ٛاق٥بء ٔٛضز اؾشفبزٜ لطاض ٥ٌطز.سٛا٘س ٘ب٘ٛٔم٥بؼ ثبقس ٚ ثطا٢ ا٘ساظٜا٘ساظ٠ زض٤چٝ ٣ٔ -3 ٗادآٍسٕ

 [ISO-TS 80004-6: 2013]ٔٙجٕ: ثطٌطفشٝ قسٜ اظ 
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9-9-6-51 

 ًـٌٖ٘ هاٗغ هشوضگشٗضتِ

centrifugal liquid sedimentation (CLS) 

قبٖ ثب اؾشفبزٜ اظ ٤ره نرفح١ درط قرسٜ اظ ؾر٥بَ زاضا٢      ضٚق٣ وٝ زض آٖ شضارِ ٔبزٜ ثط اؾبؼ چٍب٣ِ ٚ ا٘ساظٜ

 قٛز.ؾبظ٢ ٣ٔخساق٥ت چٍب٣ِ، 

٥ٔىطٚٔشرط ضا ثرب    10٘ب٘ٛٔشط سرب   2سٛا٘س ثب سٛخٝ ثٝ چٍب٣ِ شضار، ا٘ساظٜ ٚ سٛظ٤ٕ ا٘ساظٜ شضار زض ٔحسٚز٠ ا٤ٗ ضٚـ ٣ٔ - ٗادآٍسٕ

 % خساؾبظ٢ وٙس.  2ذُب٢ وٕشط اظ 

 [ISO-TS 80004-6: 2013]ٔٙجٕ: ثطٌطفشٝ قسٜ اظ 

 

9-9-6-55 

 تفاضلٖالىتشٗىٖ  تحشن ٓجذاوٌٌذ

differential electrical mobility classifier (DEMC) 

 اِىشط٤ى٣ آٟ٘ب اؾز. سحطنٞب ثط اؾبؼ ٞٛاؾُُوٝ لبزض ثٝ ا٘شربة  ثٙس٤ه َجمٝ

ؾُح ٞط ٤ه اظ آٟ٘ب، ٚ ثب اؾرشفبزٜ اظ   زضضا ثب ا٤دبز سٗبزَ زض ٥٘طٚٞب٢ اِىشط٤ى٣ ٔٛخٛز  ٞٛاؾُُ، شضار DEMC ٞط -1 ٗادآٍسٕ

 وٙس.٣ٔ ثٙس٢َجم٥٘ٝط٢ٚ وكك٣ آئطٚز٤ٙب٥ٔى٣ زض ٤ه ٥ٔساٖ اِىشط٤ى٣ 

 [ISO-TS 80004-6: 2013 ]ٔٙجٕ: ثطٌطفشٝ قسٜ اظ

 

9-9-6-52 

 جشٗاى ه٘ذاى جضءجضء وشدى تا

field flow fractionation (FFF) 

ٔشمبَٕ ٚ  خط٤بٖ، خط٤بٖثب اٖٕبَ ٥ٔساٖ ٖٕٛز ثط  ضٚـ خساؾبظ٢ شضار ٤ه ؾ٥بَِ زض حبَ ٖجٛض اظ ٤ه وب٘بَ

 ٤ب ٥ٔساٖ حطاضس٣ اؾز.

 [BSI-PAS 136: 2007 ]ٔٙجٕ: ثطٌطفشٝ قسٜ اظ

 

 

 

 

 



 5991:  25218واسٓ اٗشاى ؿ هلٖاػتاًذاسد 

   

  37 
 

 

9-9-6-59 

 ػغحٖ چگالٖ تاس الىتشٗىٖ

electric surface charge density 

اظ ٔب٤ٕ ٚ  ٞب ٤ٖٛ ٔكرم)ثٝ ز٥ُِ خصة ؾُح٣  سمؿ٥ٓ ثط ٔؿبحز آٖ زض فهُ ٔكشطنٔٛخٛز  ثبض اِىشط٤ى٣

 .ٞب٢ ؾُح٣( اؾزٌطٜٚ خب٣٤ خبث٤ٝب ثٝ ز٥ُِ 

C/m ٤ىب٢ثب ؾُح٣ اِىشط٤ى٣ چٍب٣ِ ثبض  -1 ٗادآٍسٕ
 قٛز.ث٥بٖ ٣ٔ 2

 [ISO-TS 80004-6: 2013 ]ٔٙجٕ: ثطٌطفشٝ قسٜ اظ

 

9-9-6-54 

 سٍؽ تِت

Brunauer-Emmet-Teller method (BET) 

 وٝ ٥ٌ٣ط٢ ٌبظٞب٤ا٘ساظٜ ثبسفى٥ه قسٜ ٚ/٤ب خبٔسار ٔشرّرُ  درف زاذ٣ّ ٚ ذبضخ٣ِ ٤ٚ٠ػ ضٚـ س٥٥ٗٗ ؾُح

ؾرُح٣ ٌربظ   خرصة زٔرب٢  ثطا٢ سفؿ٥ط ٞٓ ضٚـ ثِزاؾشفبزٜ اظ ٔسَ  ٚ ا٘سقسٜ 1ؾُح٣ف٥ع٤ى٣ خصة ثٝ َٛض

 .اؾز

 ٞب٢ چٙسِٔٛى٣ِٛ اؾز.زض لا٤ٝ ثِزؾُح٣ ٌبظ ا٤ٗ ضٚـ ثط اؾبؼ ٔسَ خصة -1 ٗادآٍسٕ

ٔشرّرُ( ٚ ٘رٛٔ  ٥ٔىطٚ٘ب٘ٛٔشرّرُ ٤ب  ٠ا٤ٗ ضٚـ سٟٙب ثطا٢ خصة ؾُح٣ ٕٞسٔب٢ ٘ٛٔ زْٚ )خبٔسار سفى٥ه قس -2 ٗادآٍسٕ

ُ    50 ٘رب٘ٛٔشط سرب   2عٚٔشرّرُ ثب لُط سرّرُ ث٥ٗ چٟبضْ )خبٔسار ٔ ٞرب٢ غ٥رط لبثرُ زؾشطؾر٣     ٘رب٘ٛٔشط( وربضثطز زاضز ٚ سرّرر

-ٔر٣  ٥ٌ2ط٢ قسٜ ضا خرصة وٝ ٌبظ ا٘ساظٜ اؾشفبزٜ ٕ٘ٛز سٛاٖ ثب ا٥َٕٙبٖ ثطا٢ خبٔساس٣ضا ٣ٕ٘ قٛ٘س. ضٚـ ثِزسكر٥م زازٜ ٣ٕ٘

 وٙٙس.

 [ISO-TS 80004-6: 2013 ]ٔٙجٕ: ثطٌطفشٝ قسٜ اظ

 

9-9-6-51 

 ٖه٘ىشٍالىتشٍهىاً٘ى ّإػاهاًِ

microelectromechanical systems (MEMS) 

ٔىب٥٘ى٣( ٚ ا٤دبز ٤ه دبؾرد اِىشط٤ىر٣   ٚ ٤ب ٚ سٛاٖ ٚاوٙف ثٝ سحط٤ه اِىشط٤ى٣ ) ٢ ثب اثٗبز ٘ب٘ٛٔم٥بؼاؾبٔب٘ٝ

 ٔىب٥٘ى٣( اؾز.ٚ ٤ب )

                                                 

1- Adsorb 

2- Absorb 
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 قٙبؾ٣ا٘ساظٜزض ٘ب٘ٛ سٛا٣ٖٔ ٘ب٘ٛٔم٥بؼ ٞب٢ذه٥هٝ حؿبؾ٥ز احشٕب٣ِثٝ ز٥ُِ ٞب٢ ٥ٔىطٚاِىشطٚٔىب٥٘ى٣ اظ ؾبٔب٘ٝ - ٗادآٍسٕ

 اؾشفبزٜ ٕ٘ٛز.

 [BSI-PAS 136: 2007 ]ٔٙجٕ: ثطٌطفشٝ قسٜ اظ

 

9-9-6-56 

 الىتشٍوَچٖػشػت 

electrophoretic velocity 

 اؾز. اِىشطٚوٛچ٤٣ٙس آفط زض ذلاَشضٜ  ؾطٖز

 [ISO-TS 80004-6: 2013 ]ٔٙجٕ: ثطٌطفشٝ قسٜ اظ

 

9-9-6-57 

 تفاضلٖ تحشن تحل٘ل ػاهاًِ

differential mobility analyzing system (DMAS) 

ُ  اؾرز   وٛچىشط اظ ٥ٔىطٚٔشرط  ٞٛاؾُُشضار  ٥ٌط٢ سٛظ٤ٕ ا٘ساظ٢ٜ ثطا٢ ا٘ساظٜاؾبٔب٘ٝ ، DEMC ٤ره  ورٝ قربٔ

 ثبقس.افعاض ٔٙبؾت ٣ٔوك٣ زاذ٣ّ، ضا٤ب٘ٝ ٚ ٤ه ٘طِِْٛٝ ؾبٔب٘ٝشضٜ،  آقىبضؾبظ، ؾٙحخط٤بٖ

 [ISO-TS 80004-6: 2013 ]ٔٙجٕ: ثطٌطفشٝ قسٜ اظ

 

9-9-6-58 

 ؿؼاع چشخؾ

radius of gyration 

ثرط خرطْ    ا٘رساظٜ حطورز  ض٤كٝ زْٚ حبنُ سمؿ٥ٓ ثطاثط ثب  وٝ اؾزحَٛ ٤ه ٔحٛض ا٘شربث٣  ،٥ٗٔبض سٛظ٤ٕ خطْ

 اؾز.

-٥ٌط٢ ا٘ساظٜ شضٜ، قٗبٔ چطذف ضا ا٘رساظٜ ا٘ساظٜٞب٢ ف٥ع٤ى٣ وٝ ثطا٢ ضٚـآٖ زؾشٝ اظ ٤بث٣ ٘ب٘ٛق٣ء، ثطا٢ ٔكرهٝ - ٗادآٍسٕ

 قٛز.٣ٔ 3ظا٤ٚٝ وٛچه دطسٛ ا٤ىؽ دطاوٙس٣ٌٚ  2٘ٛسط٣٘ٚ ظا٤ٚٝ وٛچه دطاوٙس٣ٌ، 1ا٤ؿشب ٘ٛض دطاوٙس٣ٌقبُٔ  وٙٙس٥ٌط٢ ٣ٔ

 [ISO-TS 80004-6: 2013 ]ٔٙجٕ: ثطٌطفشٝ قسٜ اظ

                                                 

1- Static light scattering 

2- Small angle neutron scattering (SANS) 
3- Small angle x-ray scattering (SAXS) 
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9-9-6-59 

 رسُ تشاون ٓؿواسًذ

condensation particle counter (CPC) 

ٞٛا ٚ شضار ثؿر٥بض ض٤رع، ٔٛخرت     سطاوٓوٝ ثب  اؾز ٞٛاؾُُ زؾشٍبٜ سكر٥م ٚ قٕبضـ ٘ب٘ٛشضار دطوبضثطزسط٤ٗ

 قٛز.٘ٛض٢ اؾشب٘ساضز ٣ٔ ٞب٢ثٝ ٚؾ١ّ٥ قٕبض٘سٜٞب زض ٔم٥بؼ لبثُ سكر٥م ثعضي قسٖ آٖ

 [BSI-PAS 136: 2007 ]ٔٙجٕ: ثطٌطفشٝ قسٜ اظ

 

9-9-6-21 

 فلَسػاًغ

fluorescence 

ثب َرَٛ ٔرٛج ز٤ٍرط٢ اظ آٖ     ٚ قسٜ وٝ زض آٖ ٘ٛض ثب ٤ه ََٛ ٔٛج ٔكرم سٛؾٍ ٔبزٜ خصةاؾز ا٢ دس٤سٜ

 قٛز.سبثف ٣ٔ

 [ISO-TS 80004-6: 2013 ]ٔٙجٕ: ثطٌطفشٝ قسٜ اظ

 

9-9-6-25 

 ه٘ىشٍػىَپٖ اَتَشٍاضح

super-resolution microscopy 

 قٛز.غبِجبً سٛؾٍ دطاـ ٔحسٚز ٣ٔضٚـ ٥ٔىطٚؾىٛد٣ ثب ٚيٛح فًب٣٤ ثبلاسط اظ حس ٣ِٕٛٗٔ اؾز وٝ 

ٚ ٥ٔىطٚؾرىٛد٣ ضٚقرٙب٣٤    1(٤STEDبث٣، سر١٥ّ ٘كرط اِمرب٣٤ )   سط٤ٗ ٘ٛٔ ا٤ٗ ضٚـ قبُٔ؛ ٥ٔىطٚؾىٛد٣ ٔىبٖضا٤ح -1 ٗادآٍسٕ

 ثبقس.٣ٔ 2(SIMؾبذشبض٢ )

 ث٥كشط ا٤ٗ ضٚـ ثط اؾبؼ فّٛضؾب٘ؽ اؾشٛاض اؾز. -2 ٗادآٍسٕ

 [ISO-TS 80004-6: 2013]ٔٙجٕ: ثطٌطفشٝ قسٜ اظ 

 

 

 

                                                 

1- Stimulated emission depletion 

2- Structured illumination microscopy 
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9-9-6-22 

 ه٘ىشٍػىَپٖ الىتشٍؿ٘و٘اٖٗ سٍتـٖ

scanning electrochemical microscopy (SECM) 

 ٥ٌرط٢ ا٘رساظٜ  ،1ثطلىبفرز زاذرُ ٔحّرَٛ   زض  دطٚة ٤ه ثٛؾ١ّ٥ اؾز وٝ دطٚث٣ ضٚثك٣اظ ٥ٔىطٚؾىٛد٣  ضٚق٣

 .قٛزا٘دبْ ٣ٔ 2دؿش٣ ٚ ثّٙس٢خط٤بٖ اِىشطٚق٥ٕ٥ب٣٤ ٚ ٘مكٝ ثطزاض٢ 

 [BSI-PAS 136: 2007 ثطٌطفشٝ قسٜ اظ]ٔٙجٕ: 

 

9-9-6-29 

 اًشطٕه٘ىشٍػىَپٖ الىتشٍى ون

low energy electron microscopy (LEEM) 

ٖ ا٘رطغ٢  وٓ ٞب٢ اِىشطٖٚ ٚؾ١ّ٥ثٝ  ،٤ب اٍِٛٞب٢ دطاـ ؾُح ؾُٛح ثب سهب٤ٚط ٚزض آٖ وٝ  ضٚق٣ -درؽ  وكؿرب

 .قٛزغ٥ط ضٚثك٣ ثطضؾ٣ ٣ٔ ثبض٤ى١ اِىشط٣٘ٚاظ ٤ه حبنُ  3دطاوٙسٜ

 قٛز.اؾشفبزٜ ٣ٔسه٤ٛطثطزاض٢ اظ ؾُٛح ثؿ٥بض نبف ٚ  سح٥َُّٕٔٗٛ ثطا٢  ثٝ َٛضاظ ا٤ٗ ضٚـ  -1 ٗادآٍسٕ

 زاض٘س. ا٘طغ٢ ِزٚ اِىشطٖٚ 100 سبِٚز  اِىشطٖٚ 1ا٘طغ٢ ٕٔٗٛلا ث٥ٗ وٓ ٞب٢ اِىشطٖٚ -2 ٗادآٍسٕ

 [ISO-TS 80004-6: 2013 ]ٔٙجٕ: ثطٌطفشٝ قسٜ اظ

 

9-9-6-24 

 سٍتـٖ تٍٖپشه٘ىشٍػىَپٖ 

scanning probe microscopy (SPM) 

 وٙرس. ا ضٚثرف ٔر٣  سٕبْ ؾُح ٕ٘ٛ٘ٝ ض ،قسٜ ثبظذٛضز٢ خفزٕٔٗٛلا ثب ٤ه حّمٝ  دطٚةزض آٖ وٝ  اؾز ضٚق٣

ٞب٣٤ اؾز وٝ ثطا٢ سه٤ٛطثطزاض٢ ظ٤ط٥ٔىطٚٔشط٢ اظ ٤ه ٘بْ و٣ّ ثطا٢ سٕبْ زؾشٍبٜ ضٚثك٣ دطٚث٥ٔ٣ىطٚؾىٛح 

 ٥ٌط٘س.ٚ ؾُح ٕ٘ٛ٘ٝ ثٟطٜ ٣ٔ دطٚة٥ٔبٖ ؾٛظٖ  وٙفثطٞٓ

ف٥ع٤ىر٣   درطٚة . ثرطا٢ ٔثربَ،   ورطز اؾشفبٜ  4ؾبذز ٘ب٘ٛٔٛازثطا٢  سٛا٣ٖٔ ضٚثك٣ دطٚث٣ٞب٢ ٥ٔىطٚؾىٛح ثطذ٣اظ  -1 ٗادآٍسٕ

ا٤دبز ؾُح زاضا٢ ثبفز  ثٝ ٔٙٓٛضٞب٢ ؾُح٣ ٞب ثط ض٢ٚ ؾُح، سغ٥٥ط ق٣ٕ٥ آٖ ٤ب حصف اس٤ٓب اؾشمطاض اسٓ خب٣٤ خبثٝسٛا٘س ثطا٢ 

 .وطزاؾشفبزٜ 

                                                 

1- Electrolyte 

2- Topography 

3- Backscattered 

2- Nanofabrication 
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 ٖجبضسٙس اظ: ٔٛاز٘ب٘ٛؾبذز لبثُ اؾشفبزٜ زض  ضٚثك٣ دطٚث٣ٞب٢ ٥ٔىطٚؾىٛح -2 ٗادآٍسٕ

  ("Atomic Force Microscopy "AFM)٥ٔىطٚؾىٛد٣ ٥٘ط٢ٚ اس٣ٕ  

  ("Magnetic Force Microscopy "MFM)٥ٔىطٚؾىٛد٣ ٥٘ط٢ٚ ٔغٙب٥َؿ٣  

  ("Scanning Near-field Optical Microscopy "SNOM)٥ساٖ ٘عز٤ه ٘ٛض٢ ٔضٚثك٣ ٥ٔىطٚؾىٛد٣  

  ("Scanning Electrochemical Microscopy "SECM)٥ٔىطٚؾىٛد٣ اِىشطٚق٥ٕ٥ب٣٤ ضٚثك٣ 

  ("Scanning Tunneling Microscopy "STM)ضٚثك٣  ظ٥ٔ٣٘ىطٚؾىٛد٣ سُٛ٘ 

 [BSI-PAS 136: 2007 ]ٔٙجٕ: ثطٌطفشٝ قسٜ اظ

 

9-9-6-21 

 ٖ سٍتـٖصًه٘ىشٍػىَپٖ تًَل 

scanning tunneling microscopy (STM) 

ؾٛظ٣٘ قرىُ ٚ   دطٚةثب اؾشفبزٜ اظ ٤ه  ؾُٛح ٔطسجٍ ثب چٍب٣ِ اِىشطٖٚاس٣ٕ ؾبذشبض  وٝ زض آٖضٚق٣ اؾز 

. ثب ضٚثف ؾرُح  قٛز، ٘كبٖ زازٜ ٣ٔزقٛا٤دبز ٣ٔ دطٚةزض ٘ٛن ٔشٙبٚة ب٘ؿ٥ُ ظ٣٘ وٝ ثب دش٤ه خط٤بٖ سُٛ٘

 قٛز.ثٗس٢ ٔشٙبْط ثب خط٤بٖ آٖ زض ٞط ٘مُٝ ا٤دبز ٣ٔؾٛظٖ، ٤ه سه٤ٛط ؾٝسٛؾٍ 

 قٛ٘س.ثطا٢ ا٤دبز سغ٥٥ط زض سطو٥ت ِٔٛى٣ِٛ ٔٛاز ٥٘ع اؾشفبزٜ ٣ٔ ظ٣٘ ضٚثك٣ٞب٢ س٥ُٔ٘ٛىطٚؾىٛح - ٗادآٍسٕ

 [BSI-PAS 136: 2007 ]ٔٙجٕ: ثطٌطفشٝ قسٜ اظ

 

9-9-6-26 

 فلَسػاًغه٘ىشٍػىَپٖ 

fluorescence microscopy 

 قٛز.سبثف قسٜ اظ ٔبزٜ سه٤ٛطثطزاض٢ ٣ٔ فّٛضؾب٘ؽوٝ زض آٖ  اؾز ضٚـ ٥ٔىطٚؾىٛد٣ ٘ٛض٤٢ه 

ََٛ ٔرٛج  ثٝ ٤ه ٔٙجٕ ٘ٛض٢ احش٥بج اؾز. ا٤ٗ ٔٙجٕ ٕٔٗٛلا زض ََٛ ٔٛج وٕشط٢ اظ  فّٛضؾب٘ؽ ثطا٥ٍ٘رش٣ٍثطا٢  -1 ٗادآٍسٕ

 وٙس.وبض ٣ٔ ،قٛز٘ٛض٢ وٝ ثطا٢ سكى٥ُ سه٤ٛط اؾشفبزٜ ٣ٔ

ٓ فّٛضؾرب٘ؽ )اد٣  1ا٤ٗ ضٚـ ا٘ٛأ ٌٛ٘ب٣ٌ٘ٛ زاضز وٝ قبُٔ ٥ٔساٖ ٖط٤ى -2 ٗادآٍسٕ ٥ٔىطٚؾرىٛد٣ فّٛضؾرب٘ؽ   ورب٣٘ٛ٘،  (، ٞر

 قٛز.٣ٔ ثب ٚيٛح ثبلاٚ ٥ٔىطٚؾىٛد٣  (TRIF) ثبظسبثف و٣ّ زض٣٘ٚ

 [ISO-TS 80004-6: 2013 ]ٔٙجٕ: ثطٌطفشٝ قسٜ اظ

                                                 

1-  Epifloursence 
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9-9-6-27 

  ه٘ىشٍػىَپٖ فلَسػاًغ تاصتاتؾ ولٖ دسًٍٖ

total reflected internal fluorescence  

TRIF microscopy  

قسٜ اظ ا٘ٗىربؼ زضٚ٘ر٣ ورُ    ٔٛج ٘بدب٤ساض س٥ِٛس ٚؾ١ّ٥ثٝ ٘بظن  زض ٤ه لا١٤ فّٛضؾب٘ؽاؾز وٝ زض آٖ  ضٚق٣

 قٛز.٣ٔ ثطا٥ٍ٘رشٝ

 [ISO-TS 80004-6: 2013 ]ٔٙجٕ: ثطٌطفشٝ قسٜ اظ

 

9-9-6-28 

 ٗاتٖهىاىه٘ىشٍػىَپٖ 

localization microscopy 

( فّٛضؾب٘ؽٞب٢ ٔٙفطز )ٕٔٗٛلا زل٥ك ِٔٛىَٛ ٔىبٖ ٤بث٣وٝ زض آٖ اظ اؾز ضٚق٣ اظ ٥ٔىطٚؾىٛد٣ ٚيٛح ٤ٚػٜ 

 قٛز.ثطا٢ ثبظس٥ِٛس ٤ه سه٤ٛط اؾشفبزٜ ٣ٔ

ٔشفربٚر  ٔرٛضز اؾرشفبزٜ    دطٚةا٘س. آٟ٘ب ٕٔٗٛلا زض ٘ٛٔ د٥كطفشٝ قسٜ ،٤بث٣ ٔىبٖٞب٢ ٥ٔىطٚؾىٛد٣ ثؿ٥بض٢ اظ ضٚـ -1 ٗادآٍسٕ

َ   وٝ  1ؾبظ٢٘ٛضفّٗبَ ٤بث٣ ٔىبٖٞب ٖجبضسٙس اظ: ٥ٔىطٚؾىٛد٣ ٞب٣٤ اظ ا٤ٗ ضٚـ. ٔثبَٞؿشٙس َ ٞرب٢  ثرط دب٤رٝ ِٔٛىرٛ قرٛ٘سٜ  ٘ٛضفٗرّب

ٔشٙربٚة   فّٛضؾرب٘ؽ  ١ورٝ ثرط دب٤ر    2سهربزف٣ ٘رٛض٢   ثبظؾربظ٢ ( اؾشٛاض اؾز ٚ ٥٘ع ٥ٔىطٚؾىٛد٣ فّٛضؾب٘ؽٞب٢ )ٕٔٗٛلا دطٚسئ٥ٗ

 اؾشٛاض اؾز. 4فّٛضؾب٘ؽؾبظ٠ ( ٤3ب سغ٥٥طظزٖ  )چكٕه

، سهرب٤ٚط ٘جب٤رس ٕٞذٛقرب٣٘ زاقرشٝ ثبقرٙس، ِرصا ثرطا٢        فّٛضؾب٘ؽؾبظ٠ ٞب٢ ِٔٛىَٛٔىبٖ ٕٔٗٛلا ثطا٢ زؾش٥بث٣ ثٝ  -2 ٗادآٍسٕ

 ٞرب قر٥ٜٛ ٞرب ثب٤رس ثرٝ ثطذر٣     قٛ٘س ٚ ِٔٛىَٛ ٤بث٣ٔىبٖٞب٢ ٔشٛا٣ِ لبةٞب ثب٤س زض ٤ه سه٤ٛط وبُٔ، ثؿ٥بض٢ اظ ِٔٛىَٛ ثبظؾبظ٢

 ذبٔٛـ قٛ٘س.

 [ISO-TS 80004-6: 2013 ]ٔٙجٕ: ثطٌطفشٝ قسٜ اظ

 

 

 

 

                                                 

1- Photo activation localization microscopy (PALM)   

2- Stochastic optical reconstruction microscopy (STORM) 

3- Blinking or change 

4- Fluorophores 
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9-9-6-29 

 واًَىه٘ىشٍػىَپٖ ًَسٕ ّن

confocal optical microscopy 

 ٥ٌرطز.  ٔر٣ ٔٛضز سربثف لرطاض    ،٘ٛضا٣٘ زاضا٢ دطاـ ٔحسٚز ١ق٥ئ٣ ثب ٘مُ ١اظ نفح ٤ه ٘مُٝ ،وٝ زض آٖ ضٚق٣

دطاـ )وٝ زض  نفح١ٔطوع٢  ٘بح١٥وٛچىشط اظ  ٘بح٤١٥ه  ثبٚ  قسٜٔشٕطوع  ،اظ ا٤ٗ ٘مُٝ قسٜثبظسبة٘ٛض  ؾذؽ

 قٛز.ٔىبٖ ٔشٙبْط زض نفحٝ ٥ٔساٖ ثٗس٢ لطاض زاضز( سكر٥م زازٜ ٣ٔ

سه٤ٛط ٘ٛاح٣ ثعضٌشط، اظ ضٚثف ٕ٘ٛ٘ٝ ٚ ٤ب ضٚثف ٕٞعٔبٖ ٘مبٌ ٔٛضز سبثف لطاض ٌطفشٝ ٚ سكر٥م زازٜ قسٜ حبنرُ   -1 ٗادآٍسٕ

 قٛز.٣ٔ

ذربضج  ٣ٟ٘ ٘ٛض اظ نفحبر ثطٞٓ ١ثٝ ٚؾ٥ّٔحٛض٢ ثٟشط  دص٤ط٢ سفى٥هسه٤ٛط ثٟشط ٚ  سجب٤ٗٙدط ثٝ وب٣٘ٛ٘ ٔٔجب٣٘ ٞٓ -2 ٗادآٍسٕ

 قٛز.٣ٔ اظ فٛوٛؼ

 [ISO-TS 80004-6: 2013 ]ٔٙجٕ: ثطٌطفشٝ قسٜ اظ

 

9-9-6-91 

 ه٘ىشٍػىَپٖ ًَٖٗ سٍتـٖ

scanning ion microscopy 

ٔشٕطوع قسٜ ٚ ثب ضٚثف ٤ه  وٕشط اظ ٘ب٘ٛٔشطٔم٥بؼ ثب  ٤ه ُٔٙمٝوٝ زض آٖ ٤ه دطس٢ٛ ٣٘ٛ٤ زض اؾز ضٚق٣ 

 وٙس.٣ٔ ا٤دبزؾُح اظ آٖ سه٤ٛط 

 سٛاٖ ثطا٢ سه٤ٛطثطزاض٢ اؾشفبزٜ ٕ٘ٛز.٥٘٣ٔع ، ٘ئٖٛ ٚ آضٌٖٛ، ٥ّٞٓ؛ قبُٔ ٌٛ٘بٌٖٛ اظ ٔٙبثٕ ٣٘ٛ٤ -1 ٗادآٍسٕ

 [ISO-TS 80004-6: 2013 ]ٔٙجٕ: ثطٌطفشٝ قسٜ اظ

 

9-9-6-95 

 دًّٖاًَخشاؽ

nano-scratch 

ٖطي٣ حطوز زازٜ قسٜ ٚ ثط اؾربؼ ذرطاـ    نٛضرثٝ  ضٚ٘س٣ٌ٘ب٘ٛفطٚ زض فطآ٤ٙسضٚق٣ اؾز وٝ زض آٖ ٕ٘ٛ٘ٝ 

 قٛز.  ٞب س٥٥ٗٗ ٣ٔا٤دبز قسٜ زض آٖ، اؾشحىبْ چؿجٙس٣ٌ ف٥ّٓ ٘بظن ٚ دٛقف

 [BSI-PAS 136: 2007 ]ٔٙجٕ: ثطٌطفشٝ قسٜ اظ
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9-9-6-92 

 سًٍذگًٖاًَفشٍ

nano-indentation 

 ٔؿرشٕط  دب٤فاظ ؾُح ٕ٘ٛ٘ٝ فكبض زازٜ قسٜ ٚ ٘ب٘ٛٔشط  100 ث٥ك١ٙ٥ سب ٖٕك 1فطٚضٚ٘سٜ ،وٝ زض آٖ اؾز ضٚق٣

 وٙس.ى٣ ٔٛي٣ٗ ضا س٥٥ٗٗ ٥٘٥٣ٔطٚ ٚ ٖٕك فطٚضفش٣ٍ، ذٛال ٔىب٘

 [BSI-PAS 136: 2007 ]ٔٙجٕ: ثطٌطفشٝ قسٜ اظ

 

                                                 

1- Indenter 


